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＊ Ａ 

ＡＡＳ Ａｔｏｍｉｃ Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（原子吸光分析） 

ＡＢＳ Ａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ Ｂｕｔａｄｉｎｅ Ｓｔｙｒｅｎｅ 

ＡＢＳ Ａｎｔｉ－ｌｏｃｋ Ｂｒａｋｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（アンチロックブレーキシステム） 

ＡＢＷＲ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｂｏｉｌｅｄ Ｗａｔｅｒ Ｒｅａｃｔｏｒ（新型沸騰水型軽水炉） 

ＡＣ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｎｇ Ｃｕｒｒｅｎｔ（交流⇔直流） 

ＡＣＣ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｃｈｒｏｍａ Ｃｏｎｔｒｏｌ 

ＡＣＦ Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ Ｆｉｌｍ（異方性導電フィルム） 

ＡＣＰ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ（次世代通信用プロセッサー） 

ＡＣＰ Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ Ｐａｓｔｅ（異方性導電ペースト） 

ＡＣＴ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｃｈａｎｎｅｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ ＆ Ｔｉｍｅｒ 

ＡＤ Ａｎｎｏ Ｄｏｍｉｎｉ（紀元後） 

ＡＤ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｙ（自動預金機） 

ＡＤＣ Ａｎａｌｏｇ ｔｏ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ（アナログ・ディジタル変換器） 

ＡＤＣ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｄｉａｍｅｔｅｒ Ｃｏｎｔｒｏｌ（自動直径制御） 

ＡＤＤ Ａｃｉｄ Ｄｒｏｐｌｅｔ Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ（液滴分解法） 

ＡＤＤ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｄｅｆｅｃｔ Ｄｅｔｅｃｔｏｒ（自動欠陥検出器） 

ＡＤＲ Ａｄｄｒｅｓｓ（アドレス） 

ＡＤＳ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｄａｔａ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（次世代データ処理システム） 

ＡＤＳＬ Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｌｉｎｅ（非対称デジタル加入者線電送方式） 

ＡＥ Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ（非破壊検査） 

ＡＥ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ 

ＡＥＳ Ａｕｇｅｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（オージェ電子分光分析） 

ＡＦ Ａｕｔｏ Ｆｏｃｕｓ（自動焦点） 

ＡＦＣ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｆｌｏｗ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ 

ＡＦＣ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ（自動周波数制御） 

ＡＦＭ Ａｔｏｍｉｃ Ｆｏｒｃｅ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ（原子間力顕微鏡） 

ＡＦＰＣ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＆ Ｐｈａｓｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ（自動周波数・位相制御） 

ＡＧＣ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｇａｉｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ（自動利得制御） 

ＡＧＳ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（時計の自動発電システム） 

ＡＧＶ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｇｕｉｄｅｄ Ｖｅｈｉｃｌｅ（自走型搬送車） 

ＡＨＳ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｃｒｕｉｓｅ－ａｓｓｉｓｔ Ｈｉｇｈｗａｙ Ｓｙｓｔｅｍ（走行支援道路システム） 

ＡＩ Ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ Ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ（受入検査） 

ＡＩ Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ（人工知能） 

ＡＩＤＳ Ａｃｑｕｉｒｅｄ Ｉｍｍｕｎｅ Ｄｅｆｉｃｉｅｎｃｙ Ｓｙｎｄｒｏｍｅ（後天性免疫不全症候群） 

ＡＬＣ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｌｅｖｅｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ（自動レベル制御） 

ＡＬＩＶＨ Ａｎｙ Ｌａｙｅｒ Ｉｎｎｅｒ Ｖｉａ Ｈｏｌｅ（全層インナーバイアホール構造） 

ＡＬＵ Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ ＆ Ｌｏｇｉｃ Ｕｎｉｔ（論理演算装置） 

ＡＬＷＲ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｌｉｇｈｔ Ｗａｔｅｒ Ｒｅａｃｔｏｒ（改良型軽水炉） 

ＡＭ Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（電波の振幅変調） 

ＡＭＡＴ Ａｐｐｌｉｅｄ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｃｏ．（アプライドマテリアル社） 

ＡＭＦ Ａｓｉａｎ Ｍｏｎｅｔａｒｙ Ｆｕｎｄ（アジア通貨基金） 
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ＡＭＨＳ Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｈａｎｄｌｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＡＭＩ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍ Ｉｎｃ． 

ＡＭＭ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ（次世代製造方法） 

ＡＯＰ Ａｎｏｍａｌｏｕｓ Ｏｘｙｇｅｎ Ｐｒｅｃｉｐｉｔａｔｉｏｎ（異常酸素析出） 

ＡＯＶ Ａｉｒ Ｏｐｅｒａｔｅｄ Ｖａｌｖｅｓ 

ＡＰＣ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｐｈａｓｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ（自動位相制御） 

ＡＰＣＴ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（次世代完全結晶技術） 

ＡＰＤ Ａｖａｌａｎｃｈｅ Ｐｈｏｔｏ Ｄｉｏｄｅ（なだれ増倍型フォトダイオード） 

ＡＰＥＣ Ａｓｉａ－Ｐａｃｉｆｉｃ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ（アジア太平洋経済協力会議） 

ＡＰＭ Ａｍｍｏｎｉａ Ｐｅｒｏｘｉｄｅ Ｍｉｘｔｕｒｅ（アンモニア過酸化水素混合水溶液） 

ＡＰＳ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（自動包装システム） 

ＡＰＳ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（自動位置決めシステム） 

ＡＱＬ Ａｃｃｅｐｔａｂｌｅ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｌｅｖｅｌ（合格品質水準） 

ＡＲ Ａｎｔｉ Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ（光の反射防止） 

ＡＲＬ Ａｎｔｉ－Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ Ｌａｙｅｒ（反射防止層） 

ＡＲＴ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｏｕｔｉｎｇ 

ＡＳＡ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（米国規格協会・フイルムの感度表示） 

ＡＳＣＩＩ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｏｄｅ ｆｏｒ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 

  Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ（情報交換用米国標準コード） 

ＡＳＥＴ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｕｐｅｒ－ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ 

  Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（技術研究組合超先端電子技術開発機構） 

ＡＳＧ Ａｌｕｍｉｎｏ－Ｓｉｌｉｃａｔｅ Ｇｌａｓｓ（アルミノ・ケイ酸ガラス） 

ＡＳＩＣ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ ＩＣ（特定用途向けＩＣ） 

ＡＳＯ Ａｒｅａ ｏｆ Ｓａｆｅ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ（安全動作領域） 

ＡＳＰ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ（e-mail配信プロバイダー） 

ＡＳＳ Ａｖｅｒａｇｅ Ｓａｍｐｌｅ Ｓｉｚｅ（平均サンプルサイズ） 

ＡＳＳＥＴ Ａｌｌ Ｓｐａｃｅｒ Ｓｅｐａｒａｔｅｄ Ｅｌｅｍｅｎｔ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ 

ＡＳＳＰ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｐｒｏｄｕｃｔ（特定用途向け専用標準製品） 

ＡＳＴ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｓｕｐｅｒ Ｓｐｅｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

ＡＳＴＭ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｓｏｃｉｅｔｙ ｆｏｒ Ｔｅｓｔｉｎｇ ＆ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ（米国材料試験協会） 

ＡＴ Ａｐｐｒｏｖａｌ Ｔｅｓｔ（認定試験） 

ＡＴＣ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｔｒａｆｉｃ Ｃｏｎｔｒｏｌ（自動交通制御） 

ＡＴＣ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ（自動温度制御） 

ＡＴＬＡＳ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ（自動翻訳システム） 

ＡＴＭ Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｍｏｄｅ（非同期転送モード） 

ＡＴＯＫ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｏｆ Ｋａｎａ－Ｋａｎｊｉ Ｔｒａｎｓｆｅｒ 

ＡＴＳ Ａｐｐｒｏｖａｌ Ｔｅｓｔ Ｓｙｓｔｅｍ（認定試験システム） 

ＡＴＳ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｔｒａｉｎ Ｓｔｏｐ（自動列車停止装置） 

ＡＶ Ａｕｄｉｏ－ｖｉｓｕａｌ（視聴覚の） 

ＡＶＲ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｖｏｌｔａｇｅ Ｒｅｇｕｌａｔｅｒ（自動電圧安定装置） 

ＡＹ Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｙｉｅｌｄ（組立歩留） 
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＊ Ｂ 

ＢＡＳＩＣ Ｂｅｇｉｎｎｅｒ́ ｓ Ａｌｌ－ｐｕｒｐｏｓｅ Ｓｙｍｂｏｌｉｃ 

 Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｃｏｄｅ（コンピュータ用プログラム言語） 

ＢＢ Ｂｒｅａｄ Ｂｏａｒｄ（ＩＣ設計時の回路特性チェック） 

Ｂ／Ｂ Ｂｏｏｋ ｔｏ Ｂｉｌｌ ｒａｔｉｏ（受注額対出荷額比） 

ＢＢＡ Ｂａｃｈｅｌｏｒ ｏｆ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ（経営学士） 

ＢＢＳ Ｂｕｌｌｅｔｉｎ Ｂｏａｒｄ Ｓｙｓｔｅｍ（電子掲示板システム） 

ＢＣ Ｂｅｆｏｒｅ Ｃｈｒｉｓｔ（紀元前） 

ＢＣＣ Ｂｏｄｙ Ｃｅｎｔｅｒｅｄ Ｃｕｂｉｃ 

ＢＣＤ Ｂｉｎａｒｙ Ｃｏｄｅｄ Ｄｅｃｉｍａｌ ｎｏｔａｔｉｏｎ（２進化１０進数） 

ＢＣＳ Ｂｕｒｉｅｄ Ｃｏｎｖｅｘ ｗａｖｅｇｕｉｄｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（活性層埋込み型半導体レーザー構造） 

ＢＣＵ Ｂｕｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｕｎｉｔ 

ＢＤ Ｂｕｔｔｏｎ Ｄｉｏｄｅ（ボタン型ダイオード） 

ＢＤＩ Ｂａｓｅ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ（ベース拡散分離） 

ＢＤＵ Ｂｉｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ Ｄｒｉｖｅｒ Ｕｎｉｔ 

ＢＥＦ Ｂａｎｄ Ｅｌｉｍｉｎａｔｅ Ｆｉｌｔｅｒ 

ＢＥＰ Ｂｒｅａｋ Ｅｖｅｎ Ｐｏｉｎｔ（損益分岐点） 

ＢＧＡ Ｂａｌｌ Ｇｒｉｄ Ａｒｒａｙ（はんだボールを使った表面実装型多ピン外囲器） 

Ｂｉ－ＭＯＳ Ｂｉｐｏｌａｒ ＆ ＭＯＳ ＩＣ（バイポーラ・ＭＯＳ型混載ＩＣ） 

ＢＩＯＳ Ｂａｓｉｃ Ｉｎｐｕｔ Ｏｕｔｐｕｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ（基本入出力システム） 

ＢＩＰ Ｂｉｐｏｌａｒ Ｄｅｖｉｃｅ（バイポーラ素子） 

ＢＩＴ Ｂｉｎａｒｙ Ｄｉｇｉｔ（２進数の１桁） 

ＢＭＤ Ｂｕｌｋ Ｍｉｃｒｏ Ｄｅｆｅｃｔ （バルク微少欠陥） 

ＢＮ Ｂｏｒｏｎ Ｎｉｔｒｉｄｅ（窒化ボロン） 

ＢＯＤ Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｏｘｙｇｅｎ Ｄｅｍａｎｄ（生物化学的酸素要求量） 

ＢＯＳＳ Ｂｏｏｋ ｏｆ ＳＥＭＩ Ｓｔａｎｄａｒｄ（半導体の標準化に関するマニュアル） 

ＢＯＸ Ｂｕｒｉｅｄ Ｏｘｉｄｅ Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ（埋込酸化膜による素子間分離） 

ＢＰＡ Ｂｏｎｄｉｎｇ Ｐａｄｓ ｏｎ ｔｈｅ Ａｃｔｉｖｅ Ａｒｅａ（素子上ボンディング） 

ＢＰＦ Ｂａｎｄ Ｐａｓｓ Ｆｉｌｔｅｒ（帯域通過フィルター） 

ＢＰＩ Ｂｉｔ Ｐｅｒ Ｉｎｃｈ（１インチ当りの記録密度） 

ＢＰＳＧ Ｂｏｒｏ－Ｐｈｏｓｐｈｏ－Ｓｉｌｉｃａｔｅ Ｇｌａｓｓ（ボロンとリンを含んだ酸化膜） 

ＢＳ Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｓｔａｎｄａｒｄ（英国工業規格） 

ＢＳ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ（放送衛星） 

ＢＳＤ Ｂａｃｋ Ｓｉｄｅ Ｄａｍａｇｅ（ウェーハの裏面損傷） 

ＢＳＧ Ｂｏｒｏｎ－Ｓｉｌｉｃａｔｅ Ｇｌａｓｓ（ボロンを含んだ酸化膜） 

ＢＳＰ Ｂａｃｋ Ｓｉｄｅ Ｐｏｌｙ－Ｓｉｌｉｃｏｎ（ウェーハ裏面にポリシリコン付き） 

ＢＴ Ｂｉａｓ ＆ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ 

ＢＴＣ Ｂｉａｓ ＆ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｃｙｃｌｉｎｇ（周期的ＢＴ） 

Ｂ ｔｏ Ｂ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｔｏ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ（企業間電子商取引） 

Ｂ ｔｏ Ｃ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｔｏ Ｃｏｎｓｕｍｅｒ（企業消費者間電子商取引） 

ＢＵ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｕｎｉｔ（業態単位） 

ＢＶ Ｂｏｏｋ Ｖａｌｕｅ（帳簿価格、簿価） 
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＊ Ｃ 

ＣＡ Ｃｈｅｍｉｃａｌｌｙ Ａｍｐｌｉｆｉｅｄ （化学増幅型） 

ＣＡＢＳ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ｂａｔｃｈ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＣＡＢＳ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ｂａｔｃｈ Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ Ｐｒｏｇｒａｍ 

ＣＡＤ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ｄｅｓｉｇｎ（コンピュータ支援設計システム） 

ＣＡＥ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ（コンピュータ支援工学） 

ＣＡＧＲ Ｃｏｍｐｏｕｎｄ Ａｎｎｕａｌ Ｇｒｏｗｔｈ Ｒａｔｅ（年間平均成長率） 

ＣＡＬＢ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ｌｉｎｅ Ｂａｌａｎｃｉｎｇ 

ＣＡＬＤＡＳ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ｌｉｆｅ Ｄａｔａ Ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＣＡＬＰＩＳ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ｌｏｔ Ｐｒｉｏｒｉｔｙ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＣＡＬＳ Ｃｏｍｍａｒｃｅ Ａｔ Ｌｉｇｈｔ Ｓｐｅｅｄ 

ＣＡＭ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ（コンピュータを使った製造の自動化システム） 

ＣＡＭ Ｃｏｎｔｅｎｔ Ａｄｄｒｅｓｓａｂｌｅ Ｍｅｍｏｒｙ 

ＣＡＭ Ｃｙｃｌｉｃ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ 

ＣＡＭＥＬ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ｍａｃｈｉｎｅ Ｌｏａｄｉｎｇ（コンピュータ支援装置負荷） 

ＣＡＲ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ａｖａｌａｎｃｈｅ Ｒｅｃｔｉｆｉｅｒ 

ＣＡＲＡＭ Ｃｏｎｔｅｎｔ Ａｄｄｒｅｓｓａｂｌｅ ＲＡＭ 

ＣＡＴＳ Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ａｓｓｅｍｂｌｙ ＆ Ｔｅｓｔ Ｓｙｓｔｅｍ（連続で組立・テストするシステム） 

ＣＡＴＶ Ｃａｂｌｅ Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ（有線テレビジョン放送） 

ＣＢ Ｃｉｔｉｚｅｎ Ｂａｎｄ（市民帯ラジオ） 

ＣＣ Ｃａｒｂｏｎ Ｃｏｐｙ（カーボンコピー、写し文書） 

ＣＣ Ｃｈｉｐ Ｃａｒｒｉｅｒ（チップキャリア、ＬＳＩの外囲器の一種） 

ＣＣ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｃｏｓｔ（商用価格） 

ＣＣＢ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｃｏｌｌａｐｓｅ Ｂｏｎｄｉｎｇ（はんだパンプ使用フェースダウンボンディング） 

Ｃ３ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｃｌｅａｎ ｒｏｏｍ（コンピュータで管理されたクリーンルーム） 

Ｃ３Ｌ  Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｌｏｇｉｃ 

Ｃ４ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｃｏｌｌａｐｓｅ Ｃｈｉｐ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 

ＣＣＣＺ Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｃｈａｒｇｉｎｇ Ｃｚｏｃｈｒａｌｓｋｉ （Ｍｅｔｈｏｄ） 

ＣＣＤ Ｃｈａｒｇｅ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｄｅｖｉｃｅ（電荷結合素子） 

Ｃ２ＭＯＳ Ｃｌｏｃｋｅｄ Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ ＭＯＳ 

ＣＣＲＴ Ｃｏｌｏｒ Ｃａｔｈｏｄｅ Ｒａｙ Ｔｕｂｅ（カラー陰極線管、カラーブラウン管） 

ＣＣＷ Ｃｏｕｎｔｅｒ Ｃｌｏｃｋｗｉｓｅ（反時計回り方向） 

ＣＤ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｄｉｓｃ（ディジタル信号を記録する光ディスク） 

ＣＤ Ｃｏｓｔ Ｄｏｗｎ（原価低減） 

ＣＤ Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ 

ＣＤＥ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｄｒｙ Ｅｔｃｈｉｎｇ（プラズマによる反応種を用いるエッチング） 

ＣＤＩ Ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ（コレクタ拡散分離） 

ＣＤＭＡ Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ（符号分割多元接続） 

ＣＤＰ Ｃａｒｒｉｅｒ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｐｒｏｇｒａｍ 

ＣＥＬ Ｃｏｎｔｒａｓｔ Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ 

ＣＥＯ Ｃｈｉｅｆ Ｅｘｅｃｔｉｖｅ Ｏｆｆｉｃｅｒ（最高経営責任者） 

ＣＥＯ Ｃｏｓｔ ｏｆ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ 
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ＣＥＲＤＩＰ Ｃｅｒａｍｉｃ ＤＩＰ（ＤＩＰ型の低価格セラミックパッケージ） 

ＣＦ Ｃｏｓｔ ＆ Ｆｒｅｉｇｈｔ（運賃込み値段） 

ＣＦＣ ＣｈｌｏｒｏＦｌｕｏｒｏＣａｒｂｏｎ（フロンガス） 

ＣＦＬ Ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｌｏｇｉｃ（改良型ＥＣＬ回路） 

ＣＧ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｇｒａｐｈｉｃｓ（図形や画像を作成・表示する技術） 

ＣＧ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｇｒｏｗｔｈ（単結晶成長） 

ＣＨＭＳＬ Ｃｅｎｔｅｒ Ｈｉｇｈ Ｍｏｕｎｔ Ｓｔｏｐ Ｌａｍｐ（自動車の後部中央ブレーキランプ） 

ＣＩ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（企業認識） 

ＣＩＦ Ｃｏｍｍｏｎ Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ Ｆｏｒｍａｔ（共通中間フォーマット） 

ＣＩＦ Ｃｏｓｔ， Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ＆ Ｆｒｅｉｇｈｔ（運賃保険料込み値段） 

ＣＩＭ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ（コンピュータ統合生産システム） 

ＣＩＰ Ｃｏｌｄ Ｉｓｏｔｒｏｐｉｃ Ｐｒｅｓｓ（冷感プレス） 

ＣＩＳＣ Ｃｏｍｐｌｅｘ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｓｅｔ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ（複雑命令セットコンピュータ） 

ＣＬ Ｃｒｕｃｉｂｌｅ Ｌｉｆｔｉｎｇ Ｓｐｅｅｄ（ルツボ上昇速度） 

ＣＬＫ Ｃｌｏｃｋ（クロック、時間） 

ＣＭＬ Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｍｏｄｅ Ｌｏｇｉｃ（電流モード論理回路） 

ＣＭＯＳ Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ ＭＯＳ（相補型ＭＯＳ） 

ＣＭＰ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ（化学・機械研磨） 

ＣＭＲ Ｃｏｍｍｏｎ Ｍｏｄｅ Ｒｅｊｅｃｔｉｏｎ 

ＣＭＲＲ Ｃｏｍｍｏｎ Ｍｏｄｅ Ｒｅｊｅｃｔｉｏｎ Ｒａｔｉｏ 

ＣＭＴ Ｃａｓｓｅｔｔｅ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｔａｐｅ（カセット磁気テープ） 

ＣＮＣ Ｃｏｎｄｅｎｓａｔｉｏｎ Ｎｕｃｌｅｕｓ Ｃｏｕｎｔｅｒ 

ＣＯＢ Ｃｈｉｐ ｏｎ Ｂｏａｒｄ（実装基板に直接アセンブリする技術） 

ＣＯＢＯＬ Ｃｏｍｍｏｎ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ Ｌａｎｇｕａｇｅ（事務処理用高級プログラミング言語） 

ＣＯＣ Ｃｏｓｔ Ｏｆ Ｃｏｎｓｕｍａｂｌｅ（消耗部品コスト） 

ＣＯＣＯＭ Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｎｇ Ｃｏｍｉｔｔｅｅ ｆｏｒ ｅｘｐｏｒｔ ｃｏｔｒｏｌ（対共産圏輸出統制委員会） 

ＣＯＤ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｏｘｙｇｅｎ Ｄｅｍａｎｄ（化学的酸素要求量） 

ＣＯＧ Ｃｈｉｐ ｏｎ Ｇｌａｓｓ（液晶ドライバの実装方式） 

ＣＯＭＦＥＴ Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ ＦＥＴ（電導度変調ＦＥＴ） 

ＣＯＯ Ｃｏｓｔ ｏｆ Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ（設備のコストパーフォーマンス） 

ＣＯＰ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ Ｐａｒｔｉｃｌｅ（結晶起因パーティクルまたはピット） 

ＣＯＳＭＯＳ Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ Ｓｙｍｍｅｔｒｙ ＭＯＳ 

ＣＰ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ（エッチングによる化学的研磨） 

ＣＰ Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ Ｐｒｏｇｒａｍ（企業が策定する法令遵守規定） 

ＣＰ Ｃｒｕｃｉｂｌｅ Ｐｏｓｉｔｉｏｎ（ルツボ位置） 

ＣＰＩ Ｃｙｃｌｅ ｐｅｒ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ 

ＣＰＭ Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｐａｔｈ Ｍｅｔｈｏｄ 

ＣＰＴ Ｃｏｌｏｒ Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｔｕｂｅ（カラーブラウン管） 

ＣＰＴＶ Ｃｈａｎｎｅｌ Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ ＴＶ 

ＣＰＵ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ（中央演算処理装置） 

ＣＲ Ｃａｒｄ Ｒｅａｄｅｒ（カード読取り機） 

ＣＲ Ｃｌｅａｎ Ｒｏｏｍ（クリーンルーム、空気の清浄度が制御された部屋） 
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ＣＲ Ｃｒｕｃｉｂｌｅ Ｒｏｔａｔｉｏｎ（ルツボ回転数） 

ＣＲＡＭ Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ ＭＯＳ ＲＡＭ 

ＣＲＥ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｒｅａｃｔｏｒ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ 

ＣＲＭ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（顧客情報管理システム） 

ＣＲＴ Ｃａｔｈｏｄｅ Ｒａｙ Ｔｕｂｅ（陰極線管、通称ブラウン管） 

ＣＳ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｓａｍｐｌｅ（商用見本） 

ＣＳ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ（通信衛星） 

ＣＳ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ（顧客満足度） 

ＣＳＢ Ｃｏｍｍｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ Ｂｕｓ 

ＣＳＤ Ｃｏａｔｅｄ Ｓｏｕｒｃｅ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ（不純物源塗布） 

ＣＳＩＡ Ｃｈｉｎａ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（中国半導体工業協会） 

ＣＳＭ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（顧客満足度管理） 

ＣＳＰ Ｃｈｉｐ Ｓｉｚｅ（ｏｒ Ｓｃａｌｅ） Ｐａｃｋａｇｅ（チップ大の外囲器） 

ＣＳＰ Ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｐａｃｋａｇｅ 

ＣＳＳ Ｃｈｅｃｋ Ｓｈｅｅｔ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＣＳＴ Ｃｏｓｔ Ｓｃｈｅｄｕｌｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

ＣＴ Ｃｏｍｐｕｔｅｄ Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ（コンピュータ処理Ｘ線断層撮影法） 

ＣＴＩ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｔｅｌｅｐｈｏｎｙ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ（電話とコンピュータの融合システム） 

ＣＴＲ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ 

ＣＵ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ Ｕｎｉｔ 

ＣＵ Ｃｏｓｔ Ｕｐ（価格上げ） 

ＣＶ Ｃｈｅｃｋ Ｖａｌｖｅ 

Ｃ－Ｖ Ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ－Ｖｏｌｔａｇｅ 

ＣＶＤ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ（化学反応をともなう気相成長） 

ＣＷ Ｃｌｏｃｋｗｉｓｅ（時計回り方向） 

ＣＺ Ｃｚｏｃｈｒａｌｓｋｉ Ｍｅｔｈｏｄ（単結晶の回転引上げ法） 
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＊ Ｄ 

ＤＡＣ Ｄｅｓｉｇｎ ｆｏｒ Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｃｏｓｔ－ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓ 

ＤＡＣ Ｄｉｇｉｔａｌ ｔｏ Ａｎａｌｏｇ Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ（ディジタル信号からアナログ信号への変換器） 

ＤＡＤ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｕｄｉｏ Ｄｉｓｋ 

ＤＡＰＳ Ｄｉｒｅｃｔ Ａｃｃｅｓｓ Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＤＡＴ Ｄｅｓｉｇｎ Ａｐｐｒｏｖａｌ Ｔｅｓｔ（設計機能確認試験） 

ＤＡＴ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｕｄｉｏ Ｔａｐｅｒｅｃｏｒｄｅｒ（ディジタルテープ録音装置） 

ＤＢ Ｄａｔａ Ｂａｓｅ（データベース） 

ＤＢＧ Ｄｉｃｉｎｇ Ｂｅｆｏｒ Ｇｒｉｎｄｉｎｇ（裏面グラインディングより先ダイシング） 

ＤＢＳ Ｄｉｒｅｃｔ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ（直接放送用衛星） 

ＤＣ Ｄｅｂｉｔ Ｃａｒｄ（即時決済カード） 

ＤＣ Ｄｉｒｅｃｔ Ｃｕｒｒｅｎｔ（直流） 

ＤＣＣ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃａｓｓｅｔｔｅ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ 

ＤＣＣ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｃａｓｓｅｔｔｅ（ディジタル録音用カセット） 

ＤＣＳ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｓｙｓｔｅｍ（拡散制御システム） 

ＤＣＴＬ Ｄｉｒｅｃｔ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｌｏｇｉｃ（直結型トランジスタ論理回路） 

ＤＣＵ Ｄｅｖｉｃｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｕｎｉｔ 

ＤＤ Ｄｅｓｉｇｎ Ｄａｔａ（設計データ） 

ＤＤＡ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ Ａｎａｌｙｚｅｒ 

ＤＤＣ Ｄｉｒｅｃｔ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ 

ＤＤＤ Ｄｏｕｂｌｅ Ｄｉｆｆｕｓｅｄ Ｄｒａｉｎ（二重拡散ドレイン） 

ＤＥＰＯ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ 

ＤＥＶ Ｄｅｖｉｃｅ（装置） 

ＤＦ Ｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ Ｆｒｅｅ（無転位） 

ＤＦ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｆｉｌｅ（文書ファイル） 

ＤＦＣＬ Ｄｉｒｅｃｔ Ｃｏｕｐｌｅｄ ＦＥＴ Ｌｏｇｉｃ 

ＤＩ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ Ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ 

ＤＩＡＣ Ｄｉｏｄｅ ＡＣ Ｓｗｉｔｃｈ（双方向性負性抵抗素子） 

ＤＩＣ Ｄｉｓｃｒｅｔｅ ＩＣ 

ＤＩＭＭ Ｄｕａｌ Ｉｎｌｉｎｅ Ｍｅｍｏｒｙ Ｍｏｄｕｌｅ（メモリ増設用モジュール） 

ＤＩＮ Ｄｅｕｔｓｃｈｅｓ Ｉｎｓｔｉｔｕｔ ｆｕｒ Ｎｏｒｍｕｎｇ ｅ．ｖ．（ドイツ工業規格） 

ＤＩＮＡＭＯ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｍｏｄｅｌ 

ＤＩＰ Ｄｕａｌ Ｉｎｌｉｎｅ Ｐａｃｋａｇｅ（リード挿入型ＩＣ標準外囲器） 

ＤＩＰＥＴ Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ Ｕｓｉｎｇ Ｐｒｅｆｅｒｅｎｔｉａｌ 

 Ｅｔｃｈｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

ＤＫ Ｄｏｎｏｒ Ｋｉｌｌｅｒ（ドナーキラー） 

ＤＬＬ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｌｉｎｋ Ｌｉｂｒａｒｙ（Windows用のライブラリファイル） 

ＤＬＴＳ Ｄｅｅｐ Ｌｅｖｅｌ Ｔｒａｎｓｉｅｎｔ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ 

ＤＭ Ｄｅｃｉｍａｌ Ｍｉｎｕｔｅ （６０／１００ ｓｅｃ） 

ＤＭＡ Ｄｉｒｅｃｔ Ｍｅｍｏｒｙ Ａｃｃｅｓｓ（メモリとメモリ間の直接データ転送） 

ＤＭＡ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ Ｓｙｓｔｅｍ（動的機械分析システム） 

ＤＭＡＣ Ｄｉｒｅｃｔ Ｍｅｍｏｒｙ Ａｃｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ 



 ９

ＤＭＧ Ｄｕｃｔｉｌｅ Ｍｏｄｅ Ｇｒｉｎｄｉｎｇ 

ＤＭＯＳ Ｄｏｕｂｌｅ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ ＭＯＳ（チャンネルを二重拡散したＭＯＳ） 

ＤＮ Ｄａｔａ－Ｎｅｔ 

ＤＮＡ Ｄｅｏｘｙｒｉｂｏｎｕｃｌｅｉｃ Ａｃｉｄ（デオキシリボ核酸、遺伝子の本体） 

ＤＮＳ Ｄｏｍａｉｎ Ｎａｍｅ Ｓｙｓｔｅｍ（電子メールアドレスシステム） 

ＤＯＦ Ｄｅｐｔｈ ｏｆ Ｆｏｃｕｓ（焦点深度） 

ＤＯＰＯＳ Ｄｏｐｅｄ Ｐｏｌｙ－Ｓｉｌｉｃｏｎ（不純物を拡散したポリシリコン） 

ＤＯＳ Ｄｉｓｃ Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（コンピュータの基本ソフトウェア） 

ＤＰ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ（音声認識でのマッチング方式） 

ＤＰＢ Ｄｏｕｂｌｅ Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｂｅｖｅｌ（二重正ベベル） 

ＤＲＡＭ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ（データの再書込みが必要なメモリ） 

ＤＲＭ Ｄｉｐｏｌｅ Ｒｉｎｇ Ｍａｇｎｅｔ 

ＤＳ Ｄｅｓｉｇｎ Ｓａｍｐｌｅ（設計サンプル） 

Ｄ／Ｓ－Ｙ Ｄｉｅ Ｓｏｒｔｅｒ Ｙｉｅｌｄ 

ＤＳＡ Ｄｉｆｆｕｓｅｄ Ｓｅｌｆ Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ（拡散自己整合） 

ＤＳＢ Ｄｏｕｂｌｅ Ｓｉｄｅ Ｂａｎｄ（二重側帯波） 

ＤＳＣ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ Ｓｃａｎｎｉｎｇ Ｃａｌｏｒｉｍｅｔｅｒ 

ＤＳＣ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｔｉｌｌ Ｃａｍｅｒａ（デジタル小型カメラ） 

ＤＳＭ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ Ｍｏｄｅ（液晶の動作方法の一つ） 

ＤＳＰ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ（ディジタル信号処理プロセッサー） 

ＤＳＰＷ Ｄｏｕｂｌｅ Ｓｉｄｅ Ｐｏｌｉｓｈｅｄ Ｗａｆｅｒ（両面研磨ウェーハ） 

ＤＳＵ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｕｎｉｔ（ＩＳＤＮに必要な回線接続装置） 

ＤＳＷ Ｄｉｒｅｃｔ Ｓｔｅｐｐｅｒ ｉｎ Ｗａｆｅｒ 

ＤＴＡ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ Ｔｈｅｒｍａｌ Ａｎａｌｙｚｅｒ（熱示差分析装置） 

ＤＴＥ Ｄａｔａ Ｔｅｒｍｉｎａｌ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ（データ端末装置） 

ＤＴＬ Ｄｉｏｄｅ－Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｌｏｇｉｃ（ダイオードトランジスタ論理回路） 

ＤＴＰ Ｄｅｓｋ Ｔｏｐ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ（電子編集・印刷技術） 

ＤＴＳ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｔｕｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＤＵＴ Ｄｅｖｉｃｅ Ｕｎｄｅｒ Ｔｅｓｔ（被試験体） 

Ｄ／Ｖ Ｄｅｖｉｃｅ（装置） 

ＤＶＤ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｉｄｅｏ（Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ） Ｄｉｓｃ 

ＤＶＭ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｏｌｔ Ｍｅｔｅｒ（ディジタル電圧計） 

ＤＷＢ Ｄｉｒｅｃｔ Ｗａｆｅｒ Ｂｏｎｄｉｎｇ（ウェーハ直接接着） 

ＤＷＤＭ Ｄｅｎｓｅ Ｗａｖｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ 

ＤＺ Ｄｅｎｕｄｅｄ Ｚｏｎｅ（無欠陥領域） 
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＊ Ｅ 

ＥＡＲＯＭ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ａｌｔｅｒａｂｌｅ ＲＯＭ（電気的に書換え可能なＲＯＭ） 

ＥＢ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｂｅａｍ（電子ビーム） 

ＥＣ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ（電子商取引） 

ＥＣＤ Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｃｏｐｐｅｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ（電解銅メッキ） 

ＥＣＬ Ｅｍｉｔｔｅｒ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｌｏｇｉｃ（エミッタ結合型論理回路） 

ＥＣＲ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｃｙｃｌｏｔｒｏｎ Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ（電子サイクロトロン共鳴） 

ＥＣＲ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃａｓｈ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（電子レジスタ） 

ＥＣＳ Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ（電気化学学会） 

ＥＣＴＬ Ｅｍｉｔｔｅｒ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｌｏｇｉｃ（エミッタ結合型トランジスタ論理回路） 

ＥＣＵ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｕｎｉｔ（電子制御装置） 

ＥＤ Ｅｘｐｏｒｔ Ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ（輸出申告書） 

Ｅ／Ｄ Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ ＆ Ｄｅｐｌｅｔｉｏｎ 

ＥＤＩ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｄａｔａ Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ（電子データ交換） 

ＥＤＭＯＳ Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ Ｄｅｐｌｅｔｉｏｎ ＭＯＳ 

ＥＤＯ Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｄａｔａ Ｏｕｔｐｕｔ（拡張データ出力） 

ＥＤＰ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｄａｔａ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ（電子データ処理） 

ＥＤＰＳ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｄａｔａ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（電子データ処理システム） 

ＥＤＴＡ Ｅｔｈｙｌｅｎｅ Ｄｉａｍｉｎｅ Ｔｅｔｒａ Ａｃｅｔｉｃ Ａｃｉｄ 

ＥＤＴＶ Ｅｘｔｅｎｄｅｄ Ｄｉｆｉｎｉｔｉｏｎ ＴｅｌｅＶｉｓｉｏｎ（高画質テレビ） 

ＥＤＸ Ｅｎｅｒｇｙ Ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ Ｘ－ｒａｙ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（エネルギー分散Ｘ線分光法） 

ＥＥ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｅｃｏｎｏｍｙ 

ＥＥＣ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｅｎｇｉｎｅ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ（コンピュータを使ったエンジン制御装置） 

ＥＥＣ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｃｅｎｔｅｒ 

ＥＥＣ Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ（旧欧州経済共同体） 

ＥＥＣＡ Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓ 

  Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（欧州電子部品工業会） 

Ｅ２ＣＬ Ｅｍｉｔｔｅｒ ｔｏ Ｅｍｉｔｔｅｒ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｌｏｇｉｃ 

ＥＥＧＲ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｅｘｈａｕｓｔ Ｇａｓ Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ 

ＥＥＭＯＳ Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ－Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ ＭＯＳ 

ＥＥＰＲＯＭ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ ＰＲＯＭ（電気的消去可能読み出し専用メモリ） 

ＥＥＳ Ｅｔｃｈｉｎｇ ＆ Ｅｎｃａｐ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＥＦＥＭ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｆｒｏｎｔ Ｅｎｄ Ｍｏｄｕｌｅ 

ＥＦＩ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｆｕｅｌ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ（電子式燃料噴射） 

ＥＦＳ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｆｉｌｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（電子ファイルシステム） 

ＥＧ Ｅｘｔｒｉｎｓｉｃ Ｇｅｔｔｅｒｉｎｇ 

ＥＧＲ Ｅｘｈａｕｓｔ Ｇａｓ Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ 

ＥＨＳ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ， Ｈｅａｌｔｈ， ＆ Ｓａｆｅｔｙ（環境、健康と安全） 

ＥＩ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ（技術情報標準） 

ＥＩＡ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（米国電子工業会） 

ＥＩＡＪ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

  ｏｆ Ｊａｐａｎ（日本電子機械工業会） 
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ＥＬ Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ（電場発光） 

Ｅ／Ｌ Ｅｘｐｏｒｔ Ｌｉｃｅｎｓｅ（輸出許可証） 

ＥＬＡＭ Ｅｔｃｈｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｕｓｉｎｇ Ｌｏｎｇ Ｌｉｆｅ Ａｃｔｉｖｅ 

 Ｓｐｅｃｉｅｓ Ｅｘｃｉｔｅｄ ｂｙ Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ 

ＥＬＴＲＡＮ Ｅｐｉｔａｘｉａｌ Ｌａｙｅｒ Ｔｒａｎｓｆｅｒ（ＳＯＩウェーハ製法の一種） 

ＥＭ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ（技術的メモ） 

ＥＭＣ Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ Ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ（電磁環境における両立性） 

ＥＭＩ Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ（電磁干渉、障害） 

ＥＭＭＩ Ｅｐｏｘｙ Ｍｏｌｄｉｎｇ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ 

ＥＭＰ Ｅｓｔｉｍａｔｅｄ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｐｒｉｃｅ（見積材料価格） 

ＥＭＳ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ（電子機器の製造受託サービス） 

ＥＭＳ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ（環境マネジメントシステム） 

ＥＰ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ（卓越した商品） 

ＥＰＤ Ｅｔｃｈ Ｐｉｔ Ｄｅｎｓｉｔｙ（エッチピット密度） 

ＥＰＩ Ｅｐｉｔａｘｉａｌ Ｇｒｏｗｔｈ（エピタキシャル成長） 

ＥＰＩＣ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ ｂｙ Ｐｏｌｙ Ｃｒｙｓｔａｌ ＩＣ 

ＥＰＬ ＥＢ Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ（ＥＢ投影露光） 

ＥＰＭＡ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｐｒｏｂｅ Ｍｉｃｒｏ Ａｎａｌｙｚｅｒ（電子プローブ微少分析法） 

ＥＰＯＣ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ ＆ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ 

 ｏｆ Ｃｏｍｉｎｇ Ａｇｅ 

ＥＰＲ Ｅｍｉｔｔｅｒ ｗｉｔｈ Ｐｏｌｙ－Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｂａｌａｎｃｅｄ Ｒｅｓｉｓｔｏｒ 

ＥＰＲＯＭ Ｅｒａｓａｂｌｅ ＆ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ（紫外線により消去可能で再書込みできるＲＯＭ） 

ＥＲ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｒｅｐｏｒｔ 

ＥＲＰ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｐｌａｎｎｉｎｇ（総合基幹業務システム） 

ＥＲＳＯ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ＆ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

  Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（ｏｆ Ｔａｉｗａｎ）（台湾電子工業研究所） 

ＥＳ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｓａｍｐｌｅ（技術的サンプル） 

ＥＳ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ Ｓａｍｐｌｅ（評価用サンプル） 

ＥＳＣＡ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ ｆｏｒ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ 

ＥＳＨ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ， Ｓａｆｅｔｙ ａｎｄ Ｈｅａｌｔｈｙ（環境、安全、健康） 

ＥＳＰ Ｅｎｂｅｄｄｅｄ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｐｒｏｄｕｃｔ（基本回路を埋め込んだウェーハ標準製品） 

ＥＳＲ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｓｌｉｄｅ Ｒｕｌｅ（電子計算尺） 

ＥＳＴ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｓｐａｒｋ Ｔｉｍｉｎｇ 

ＥＴＣ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｔｏｌｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（ノンストップ自動料金収受システム） 

ＥＵＶ Ｅｘｔｒｅｍｅ Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ（遠紫外線） 

ＥＶ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌｅ（電気自動車） 

ＥＶＡＰ Ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ（蒸着） 

ＥＸＴ Ｅｘｈａｕｓｔ（排気） 

ＥＸＴ Ｅｘｔｅｒｎａｌ（外部） 
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＊ Ｆ 

ＦＡ Ｆａｃｔｏｒｙ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ（工場内生産の自動化） 

ＦＡＢ Ｆｕｌｌ Ａｕｔｏ Ｂｏｎｄｅｒ（全自動ワイヤボンダ） 

ＦＡＭ Ｆｕｌｌ Ａｕｔｏ Ｍｏｕｎｔｅｒ（全自動チップマウンタ） 

ＦＡＭＯＳ Ｆｌｏａｔｉｎｇ Ｇａｔｅ Ａｖａｌａｎｃｈｅ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ ＭＯＳ 

ＦＡＰＳ Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ（フレキシブル自動化生産システム）

ＦＡＱ Ｆｒｅｑｕｅｎｔｌｙ Ａｓｋｅｄ Ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ（インターネットでよくある質問と回答集） 

ＦＢＧＡ Ｆｉｎｅ ｐｉｔｃｈ Ｂａｌｌ Ｇｒｉｄ Ａｒｒａｙ（微細化ＢＧＡ） 

ＦＢＲ Ｆａｓｔ Ｂｒｅｅｄｅｒ Ｒｅａｃｔｏｒ（高速増殖炉） 

ＦＣ Ｆｉｎｅ Ｃｅｒａｍｉｃｓ（ファインセラミックス） 

ＦＣ Ｆｌｉｐ Ｃｈｉｐ（フリップチップ） 

ＦＣＣ Ｆａｃｅ Ｃｅｎｔｅｒｅｄ Ｃｕｂｉｃ 

ＦＣＣ Ｔｈｅ Ｆｅｄｅｒａｌ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ（米国通信委員会） 

ＦＣＣＺ Ｆｕｌｌ－ｒａｎｇｅ Ｒｅｓｉｓｔｉｖｉｔｙ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ ＣＺ（抵抗率制御連続引上げ） 

ＦＣＮ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ（ファンクション、機能） 

ＦＤ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｄａｔａ（財政データ） 

ＦＤＣ Ｆｌｏｐｐｙ Ｄｉｓｋ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ（フロッピーディスク制御装置） 

ＦＤＤ Ｆｌｏｐｐｙ Ｄｉｓｋ Ｄｒｉｖｅ（フロッピーディスク駆動装置） 

ＦＤＴ Ｆｌｏｗ Ｄｕｒａｔｉｏｎ Ｔｉｍｅ（樹脂の流れ持続時間） 

ＦＥＤ Ｆｉｅｌｄ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｄｉｓｐｌａｙ（電子放射型平面表示装置） 

ＦＥＭ Ｆｉｅｌｄ Ｅｆｆｅｃｔ Ｍｏｄｅ 

ＦＥＭ Ｆｉｎｉｔｅ Ｅｌｅｍｅｎｔ Ｍｅｔｈｏｄ（有限要素法） 

ＦｅＲＡＭ Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ ＲＡＭ （強誘電体不揮発性メモリ） 

ＦＥＴ Ｆｉｅｌｄ Ｅｆｆｅｃｔ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（電界効果トランジスタ） 

ＦＦ Ｆａｓｔ Ｆｏｒｗａｒｄ（早送り） 

ＦＦ Ｆｌｉｐ Ｆｌｏｐ（フリップフロップ） 

ＦＦＰ Ｆｉｌｍ Ｆｌａｔ Ｐａｃｋａｇｅ 

ＦＦＵ Ｆａｎ Ｆｉｌｔｅｒ Ｕｎｉｔ（送風機・フィルター一体化ユニット） 

ＦＩＢ Ｆｏｃｕｓｅｄ Ｉｏｎ Ｂｅａｍ（集束型イオンビーム） 

ＦＩＦＯ Ｆａｓｔ－Ｉｎ， Ｆａｓｔ－Ｏｕｔ（先入れ先出し、データ記憶の一方式） 

ＦＩＴ Ｆａｉｌｕｒｅ Ｕｎｉｔ（故障率の単位、１ＦＩＴ＝１０－９／時間） 

ＦＭ Ｆｌｏｗ Ｍｅｔｅｒ（流量計） 

ＦＭ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（電波の周波数変調） 

ＦＭＥＡ Ｆａｉｌｕｒｅ Ｍｏｄｅ Ｅｆｆｅｃｔ Ａｎａｌｙｓｉｓ（故障モード影響解析） 

ＦＭＳ Ｆｉｌｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ（ファイル管理システム） 

ＦＭＳ Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（少量多品種生産システム） 

ＦＭＵ Ｆａｎ Ｍｏｄｕｌｅ Ｕｎｉｔ 

ＦＭＶ Ｆａｉｒ Ｍａｒｋｅｔ Ｖａｌｕｅ（公正市場価格） 

ＦＯＢ Ｆｒｅｅ Ｏｎ Ｂｏａｒｄ（本船渡し） 

ＦＯＭＡ Ｆｒｅｅｄｏｍ Ｏｆ Ｍｏｂｉｌｅ ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ 

   Ａｃｃｅｓｓ（ＮＴＴドコモの第３世代移動通信サービス） 

ＦＯＲ Ｆｒｅｅ Ｏｎ Ｒａｉｌ（鉄道渡し） 
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ＦＯＲＴＲＡＮ Ｆｏｒｍｕｌａ Ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ（科学技術用高級プログラミング言語） 

ＦＯＵＰ Ｆｒｏｎｔ Ｏｐｅｎｉｎｇ Ｕｎｉｆｉｅｄ Ｐｏｄ（前面開閉型自動化対応ウェーハ容器） 

ＦＰ Ｆｌａｔ Ｐａｃｋａｇｅ（平面リードピン型パッケージ） 

ＦＰＤ Ｆｌａｔ Ｐａｎｅｌ Ｄｉｓｐｌａｙ（平面型表示装置） 

ＦＰＤ Ｆｌｏｗ Ｐａｔｔｅｒｎ Ｄｅｆｅｃｔ（フローパターン欠陥） 

ＦＰＤ Ｆｏｃａｌ Ｐｌａｎｅ Ｄｅｖｉａｔｉｏｎ（設定基準面に対する凹凸の最大値） 

ＦＰＧＡ Ｆｉｅｌｄ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ 

ＦＰ－ＬＤ Ｆａｂｒｙ Ｐｅｒｏｔ Ｌａｓｅｒ Ｄｉｏｄｅ（ファブリペロー型半導体レーザ） 

ＦＰＭ Ｆａｓｔ Ｐａｇｅ Ｍｏｄｅ（ＤＲＡＭのアクセス法の一つ） 

ＦＰＰ Ｆｌａｔ Ｐｌａｓｔｉｃ Ｐａｃｋａｇｅ（平型樹脂成形外囲器） 

ＦＱＡ Ｆｌａｔｎｅｓｓ Ｑｕａｌｉｔｙ Ａｒｅａ（ウェーハの平坦度適用領域） 

ＦＲ Ｆａｉｌｕｒｅ Ｒａｔｅ（故障率） 

ＦＲＡＭ Ｆｅｒｏｅｌｅｃｔｏｒｏ ＲＡＭ（不揮発性強誘電体ＲＡＭ） 

ＦＲＤ Ｆａｓｔ Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｄｉｏｄｅ（高速レクチファイヤ） 

ＦＲＰ Ｆｉｂｅｒ Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ Ｐｌａｓｔｉｃ（繊維強化プラスチック） 

ＦＳ Ｆｅａｓｉｂｉｌｉｔｙ Ｓｔｕｄｙ（企業化調査） 

ＦＳ Ｆｕｔｕｒｅ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＦＳＫ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｓｈｉｆｔ Ｋｅｙｉｎｇ（周波数偏移方式の） 

ＦＴ Ｆａｃｔｏｒ ｂｙ Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ 

ＦＴ Ｆｉｅｌｄ Ｔｅｓｔ（実装試験） 

ＦＴ Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ 

ＦＴＧ Ｆｉｌｍ Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ Ｇａｕｇｅ（薄膜厚さゲージ） 

ＦＴＩＲ Ｆｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ Ｉｎｆｒａｒｅｄ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（フーリエ変換赤外分光法） 

ＦＴＰ Ｆａｓｔ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓ 

ＦＴＰ Ｆｉｌｅ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ファイル転送方式） 

ＦＴＴＨ Ｆｉｂｅｒ Ｔｏ Ｔｈｅ Ｈｏｍｅ（家庭への光ファイバー） 

ＦＵ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｕｎｉｔ（機能単位） 

ＦＹ Ｆｉｓｃａｌ Ｙｅａｒ（会計年度） 

ＦＺ Ｆｌｏａｔｉｎｇ Ｚｏｎｅ （Ｍｅｔｈｏｄ）（帯域溶融法：単結晶製造の一方法） 
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＊ Ｇ 

Ｇ Ｇｒｏｓｓ（総体） 

ＧＡ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ（ゲートアレイ、セミカスタムＬＳＩ） 

ＧＡＬＳ Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｌｉｎｅ Ｓｉｍｕｌａｔｅｒ 

ＧＡＰ Ｇａｒｉｕｍ Ｐｈｏｓｐｈｉｄｅ（ガリウムりん） 

ＧＡＴＴ Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ ｏｎ Ｔａｒｉｆｆｓ ＆ Ｔｒａｄｅ（関税と貿易に関する一般協定） 

ＧＢＩＲ Ｇｌｏｂａｌ， Ｂａｃｋｓｕｒｆａｃｅ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ， Ｉｄｅａｌ ｐｌａｎｅ， Ｒａｎｇｅ 

ＧＣ Ｇａｓ Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈ（ガスクロマトグラフ） 

ＧＣＳ Ｇａｔｅ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｓｗｉｔｃｈ（ＧＴＯサイリスタ） 

ＧＤＰ Ｇｒｏｓｓ Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｐｒｏｄｕｃｔ（国内総生産） 

ＧＥＭＦＥＴ Ｇａｉｎ Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ Ｍｏｄｅ ＦＥＴ 

ＧＦ３Ｄ Ｇｌｏｂａｌ， Ｆｒｏｎｔｓｕｒｆａｃｅ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ， ３－ｐｏｉｎｔ， Ｄｅｖｉａｔｉｏｎ 

ＧＦＡ Ｇａｓ Ｆｕｓｉｏｎ Ａｎａｌｙｓｉｓ（ガス溶解化分析） 

ＧＧＩ Ｇｏｌｄ ｔｏ Ｇｏｌｄ Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ（基本的なフリップチップの接合法） 

ＧＧＧ Ｇａｄｏｌｉｎｉｕｍ Ｇａｌｌｉｕｍ Ｇａｒｎｅｔ（ガドリニウム・ガリウム・ガーネット） 

ＧＨＧ Ｇｒｅｅｎ Ｈｏｕｓｅ Ｇａｓ（温室効果ガス） 

ＧＩＦ Ｇｒａｐｈｉｃｓ Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ Ｆｏｒｍａｔ（パソコン通信用画像フォーマット） 

ＧＩＯＲ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｉｎｐｕｔ Ｏｕｔｐｕｔ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ 

ＧＮＬ Ｇｅｎｅｒａｌ 

ＧＮＰ Ｇｒｏｓｓ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔ（国民総生産） 

ＧＯＡ Ｇｌｏｂａｌ Ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ（衝突安全ボディー） 

ＧＯＩ Ｇａｔｅ Ｏｘｉｄｅ Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ（ゲート酸化膜耐圧） 

ＧＯＰＳ Ｇｉｇａ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ｐｅｒ Ｓｅｃｏｎｄ 

ＧＰＳ Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（全地球位置把握システム） 

ＧＰＳＳ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｐｕｒｐｏｓｅ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ（シミュレーション言語） 

ＧＲ Ｇｒｏｗｔｈ Ｒａｔｅ（成長率） 

ＧＳＩ Ｇｉａｎｔ Ｓｃａｌｅ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ（巨大規模集積化） 

ＧＴ Ｇｒｏｕｐ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（類似部品加工法） 

ＧＴＯ Ｇａｔｅ Ｔｕｒｎ－Ｏｆｆ Ｔｈｙｒｉｓｔｏｒ（自己消孤型整流素子） 

ＧＴＲ Ｇｉａｎｔ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（大電力トランジスタ） 

ＧＵＩ Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（対話型画像処理インターフェース） 

ＧＷ Ｇｒｏｓｓ ｐｅｒ Ｗａｆｅｒ 

ＧＷＰ Ｇｌｏｂａｌ Ｗａｒｍｉｎｇ Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ （地球温暖化係数） 
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＊ Ｈ 

ＨＡＩ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ Ａｎｎｅａｌｅｄ Ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ Ｇｅｔｔｅｒｉｎｇ（ウェーハの水素処理） 

ＨＢ Ｈｏｌｉｚｏｎｔａｌ Ｂｒｉｄｇｅｍａｎ 

ＨＢＴ Ｈｅｔｅｒｏｊｕｎｃｔｉｏｎ Ｂｉｐｏｌａｒ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（異接合トランジスタ） 

ＨＣ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ Ｃｈｌｏｒｉｄｅ（塩化水素） 

ＨＤＤ Ｈａｒｄ Ｄｉｓｋ Ｄｒｉｖｅ（ハードディスク装置） 

ＨＤＴＶ Ｈｉｇｈ Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ（高品位テレビジョン） 

ＨＥＤ Ｈｉｇｈ Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ Ｄｉｏｄｅ（高速高効率整流素子） 

ＨＥＭＴ Ｈｉｇｈ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（高電子移動度トランジスタ） 

ＨＥＰＡ Ｈｉｇｈ Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ Ａｉｒ（高効率微粒子除去用） 

ＨＦ Ｈｉｇｈ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ（高周波） 

ＨＦＣ Ｈｙｂｒｉｄ Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ Ｃｉｒｃｕｉｔ 

ＨＦＣ Ｈｙｄｒｏｆｌｕｏｒｏ Ｃａｒｂｏｎ（代替フロンの一つ） 

Ｈ３ＩＴ  Ｈｉｇｈ Ｄｅｎｓｉｔｙ ＆ Ｈｉｇｈ Ｐｏｗｅｒ Ｈｙｂｒｉｄ 

 Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

ＨＩ Ｈｕｍａｎ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（マンマシンインタフェース） 

ＨＩＣ Ｈｙｂｒｉｄ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ（混成集積回路、ハイブリッドＩＣ） 

ＨＩＰ Ｈｏｔ Ｉｓｏｓｔａｔｉｃ Ｐｒｅｓｓ（熱間静水圧プレス） 

ＨＩＶ Ｈｕｍａｎ Ｉｍｍｕｎｏｄｅｆｉｃｉｅｎｃｙ Ｖｉｒｕｓ（ヒト免疫不全ウイルス） 

ＨＭＬ Ｈａｌｆ Ｍｉｒｒｏｒ Ｌａｐｐｉｎｇ（半鏡面ポリッシング） 

ＨＭＳＬ Ｈｉｇｈ Ｍｏｕｎｔ Ｓｔｏｐ Ｌａｍｐ（自動車の後高部ブレーキランプ） 

ＨＰＦ Ｈｉｇｈ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｆｉｌｔｅｒ 

ＨＳＣ Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｃｏｍｂｉｎｅｄ Ｓｙｓｔｅｍ（高速度組立工程連結システム） 

ＨＴＭＬ Ｈｙｐｅｒ Ｔｅｘｔ Ｍａｒｋｕｐ Ｌａｎｇｕａｇｅ（ウェブページ作成編集用言語） 

ＨＴＬ Ｈｉｇｈ－Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ Ｌｏｇｉｃ 

ＨＴＲＢ Ｈｉｇｈ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｂｉａｓ（高温逆バイアス） 

ＨＴＴＬ Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ－Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｌｏｇｉｃ（高速ＴＴＬ） 

ｈｔｔｐ Ｈｙｐｅｒ Ｔｅｘｔ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ｗｗｗサーバとクライアントのプロトコル） 

ＨＶ Ｈｉｇｈ Ｖｏｌｔａｇｅ Ｐｏｗｅｒ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（高耐圧水平出力トランジスタ） 
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＊ Ｉ 

Ｉ３００Ｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ３００ｍｍ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ 

ＩＡＣＳ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ａｎｎｅａｌｅｄ Ｃｏｐｐｅｒ Ｓｔａｎｄａｒｄ 

ＩＢＰ Ｉｎｔｅｒｎａｌ Ｂｉｌｌｅｄ Ｐｒｉｃｅ 

ＩＢＴ Ｉｏｎ－Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ Ｂａｓｅ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

ＩＣ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ（集積回路、通称アイシー） 

ＩＣ Ｉｏｎ Ｃｈｒｏｍａｔｏ－ｇｒａｐｈｙ 

ＩＣＰ－ＭＳ Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｐｌａｓｍａ－Ｍａｓｓ 

  Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ（誘導結合プラズマ質量分析器） 

ＩＣＵ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｕｎｉｔ（インターフェース制御装置） 

ＩＤ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（識別、認識番号） 

ＩＤ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ 

ＩＤ Ｉｎｎｅｒ Ｄｉａｍｅｔｅｒ（内径） 

ＩＤＭ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｄｅｖｉｃｅ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ（垂直統合型ＬＳＩメーカー） 

ＩＥ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ（生産技術） 

ＩＥＣ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｌｅｃｔｒｏｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ（国際電気標準会議） 

ＩＥＤＭ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｄｅｖｉｃｅｓ Ｍｅｅｔｉｎｇ（国際電子デバイス学会） 

ＩＥＥＥ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ａｎｄ 

  Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ（米国電気・電子技術者協会） 

ＩＥＧＴ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｇａｔｅ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ 

ＩＦ Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ（中間周波数） 

ＩＦＤ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ Ｄｒｉｖｅｒ 

ＩＧ Ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ Ｇｅｔｔｅｒｉｎｇ（内部からの不純物ゲッタリング） 

ＩＧＴ Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ Ｇａｔｅ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ 

ＩＧＢＴ Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ Ｇａｔｅ Ｂｉｐｏｌａｒ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（絶縁ゲート型トランジスタ） 

ＩＨ Ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ Ｈｅａｔｉｎｇ（誘導加熱） 

Ｉ２Ｌ  Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌｏｇｉｃ（飽和型論理回路素子） 

Ｉ２Ｐ  Ｉｏｎ Ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓ（イオン注入工程） 

Ｉ３Ｌ  Ｉｓｏｐｌａｎａｒ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌｏｇｉｃ 

Ｉ／Ｌ Ｉｍｐｏｒｔ Ｌｉｃｅｎｃｅ（輸入許可証） 

ＩＬＢ Ｉｎｎｅｒ Ｌｅａｄ Ｂｏｎｄｅｒ（ＴＡＢの内部リードボンダ） 

ＩＬＩＣ Ｉｍｐｏｒｔ Ｌｉｂｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ＩＣ 

ＩＭ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ（技術情報メモ） 

ＩＭ Ｉｏｎ Ｍｉｌｌｉｎｇ（イオンによる加工） 

ＩＭＡ Ｉｏｎ Ｍｉｃｒｏ Ａｎａｌｙｚｅｒ（イオンによる微小分析装置） 

ＩＭＥ Ｉｎｐｕｔ Ｍｅｔｈｏｄ Ｅｄｉｔｏｒ（Ｗｉｎｄｏｗｓの文字入力用ソフトウエア） 

ＩＭＭＡ Ｉｏｎ Ｍｉｃｒｏｐｒｏｂｅ Ｍａｓｓ Ａｎａｌｉｓｉｓ 

ＩＭＰＡＴＴ Ｉｍｐａｃｔ Ｉｏｎｉｚａｔｉｏｎ Ａｖａｌａｎｃｈｅ ＆ Ｔｒａｎｓｉｔ Ｔｉｍｅ 

ＩＭＰＬＡ Ｉｏｎ Ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ（イオン注入） 

ＩＮＳ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＩＯ Ｉｎｐｕｔ， Ｏｕｔｐｕｔ 

Ｉ／Ｏ Ｉｎｐｕｔ ＆ Ｏｕｔｐｕｔ（入出力） 
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ＩＯＰ Ｉｎｐｕｔ Ｏｕｔｐｕｔ Ｐｒｏｃｅｓｓｅｒ（入出力処理装置） 

ＩＰ Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ （知的財産、設計資産） 

ＩＰ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（インターネットプロトコル） 

ＩＰＡ Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ Ａｌｃｏｈｏｌ（イソプロピルアルコール） 

ＩＰＣＤ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｄｅｖｉｃｅ（集積型電力制御素子） 

ＩＰＤ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｖｉｃｅ（集積型電源素子） 

ＩＰＭ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｐｏｗｅｒ Ｍｏｄｕｌｅ（集積型電源モジュール） 

ＩＰＯＳ Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ ｂｙ Ｏｘｉｄｉｚｅｄ Ｐｏｒｏｕｓ Ｓｉｌｉｃｏｎ 

ＩＰＳ Ｉｎｓｔａｎｔａｎｅｏｕｓ Ｐｏｗｅｒ Ｓｕｐｐｌｙ 

ＩＰｖ６ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ ｖｅｒｓｉｏｎ ６（次世代インターネット通信方式） 

ＩＲ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｒｅｔｒｉｅｖａｌ（情報検索） 

ＩＲ Ｉｎｆｒａｒｅｄ（赤外） 

ＩＳＤＮ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ（統合デジタル通信網） 

ＩＳＨＭ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ ｆｏｒ Ｈｙｂｒｉｄ Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ 

ＩＳＩＲ Ｉｎｉｔｉａｌ Ｓａｍｐｌｅ Ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ Ｒｅｐｏｒｔ 

ＩＳＯ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ  

  ｆｏｒ Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ（国際標準化機構） 

ＩＳＰ Ｉｎｔｅｒｎａｌ Ｓａｌｅｓ Ｐｒｉｃｅ（企業内売価） 

ＩＳＰ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ（インターネットサービスプロバイダ） 

ＩＳＳ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ 

ＩＳＳＣＣ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｏｌｉｄ Ｓｔａｔｅ  

  Ｃｉｒｃｕｉｔ Ｃｏｆｅｒｅｎｃｅ（国際固体電子回路会議） 

ＩＳＳＭ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ ｏｎ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ  

 Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ（半導体製造国際シンポジウム） 

ＩＳＶ Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｖｅｎｄｅｒ（独立系ソフトウエア販売社） 

ＩＴ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（情報技術、情報産業） 

ＩＴＭ Ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｍｅｔａｌ 

ＩＴＯ Ｉｎｄｉｕｍ Ｔｉｎ Ｏｘｉｄｅ（インジウム・錫酸化膜） 

ＩＴＯＸ Ｉｎｔｅｒｎａｌ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ 

ＩＴＲＩ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ（台湾工業技術研究院） 

ＩＴＳ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ（高度道路交通システム） 

ＩＶＨ Ｉｎｔｅｒｓｔｉｔｉａｌ Ｖｉａ Ｈｏｌｅ（インナーバイアホール） 
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＊ Ｊ 

ＪＡＮ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｎｕｍｂｅｒ（日本国内の標準規格バーコード） 

ＪＣＲ Ｊｕｎｃｔｉｏｎ Ｃｏａｔｉｎｇ Ｒｅｓｉｎ（接合保護用樹脂） 

ＪＥＤＥＣ Ｊｏｉｎｔ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｄｅｖｉｃｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｃｏｕｎｃｉｌ 

ＪＥＩＤＡ Ｊａｐａｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 

  Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（日本電子工業振興協会） 

ＪＥＩＴＡ Ｊａｐａｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ ａｎｄ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

  Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（電子情報技術産業協会） 

ＪＥＳＳＩ Ｊｏｉｎｔ Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｓｉｌｉｃｏｎ 

  Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ（欧州次世代半導体開発共同事業体） 

ＪＥＴＲＯ Ｊａｐａｎ Ｅｘｔｅｒｎａｌ Ｔｒａｄｅ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（日本貿易振興会） 

ＪＩＳ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ（日本工業規格） 

ＪＩＴ Ｊｕｓｔ ｉｎ Ｔｉｍｅ（ジャストインタイム、ジット） 

ＪＪ Ｊｏｓｅｐｈｓｏｎ Ｊｕｎｃｔｉｏｎ（ジョセフソン接合） 

ＪＰＣ Ｊａｐａｎ Ｐａｔｅｎｔ Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ（日本特許分類） 

ＪＰＥＧ Ｊｏｉｎｔ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ（カラー画像符号化方式の国際標準） 

ＪＳＮＭ Ｊａｐａｎ Ｓｏｃｉｅｔｙ ｏｆ Ｎｅｗｅｒ Ｍｅｔａｌｓ（社団法人 新金属協会） 

ＪＳＴ Ｊａｐａｎ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｔｉｍｅ（日本標準時） 

ＪＳＴＭ Ｊａｐａｎ Ｓｏｃｉｅｔｙ ｆｏｒ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ（日本材料試験協会） 

ＪＶ Ｊｏｉｎｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ（共同企業体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ Ｋ 

ＫＥＣ ＫＯＲＥＡ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．（韓国電子株式会社） 

ＫＦＳ Ｋｅｙ ｆｏｒ Ｓｕｃｃｅｓｓ（成功への鍵） 

ＫＧＤ Ｋｎｏｗｎ Ｇｏｏｄ Ｄｉｅ（品質保証したベアチップ） 

ＫＩＮＧ Ｋｅｙ－ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ  

  ｆｏｒ Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｓｉ－ｃｒｙｓｔａｌ 

ＫＰＲ Ｋｏｄａｋ Ｐｈｏｔｏ Ｒｅｓｉｓｔ（コダック感光剤） 

ＫＳＩＡ Ｋｏｒｅａ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（韓国半導体産業協会） 

ＫＵＢＩＣ Ｋｉｔａｋｙｕｓｙｕ Ｗｏｒｋｓ Ｂｉｐｏｌａｒ ＩＣ 
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＊ Ｌ 

ＬＡＮ Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ（構内情報通信網） 

ＬＡＰ Ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｐｈｏｎｅ 

ＬＡＳＥＲ Ｌｉｇｈｔ Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｂｙ Ｓｔｉｍｕｌａｔｅｄ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ 

 ｏｆ Ｒａｄｉａｔｉｏｎ（レーザ） 

ＬＢＰ ＬＡＳＥＲ Ｂｅａｍ Ｐｒｉｎｔｅｒ（レーザビームプリンタ） 

ＬＣ Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ（液晶） 

Ｌ／Ｃ Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ Ｃｒｅｄｉｔ（信用状） 

ＬＣＡ Ｌｉｆｅ Ｃｙｃｌｅ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ（製品の製造から廃棄まで） 

ＬＣＡ Ｌｏｗ Ｃｏｓｔ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ（低価格な自動化） 

ＬＣＣ Ｌｅａｄｌｅｓｓ Ｃｈｉｐ Ｃａｒｒｉｅｒ（リードの無い表面実装タイプのＬＳＩ外囲器） 

ＬＣＣ Ｌｉｆｅ Ｃｙｃｌｅ Ｃｏｓｔ 

ＬＣＤ Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ（液晶表示装置） 

ＬＣＬ Ｌｏｗｅｒ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｌｉｍｉｔ（下部管理限界） 

ＬＣＰ Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｐｏｌｙｍｅｒ（液晶重合体） 

ＬＣＳ Ｌａｙｏｕｔ Ｃｈｅｃｋ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

ＬＤ Ｌａｓｅｒ Ｄｉｏｄｅ（半導体レーザ用ダイオード） 

ＬＤＤ Ｌｉｇｈｔｌｙ Ｄｏｐｅｄ Ｄｒａｉｎ 

ＬＤＩＰ Ｌａｒｇｅ ＤＩＰ 

ＬＥＣ Ｌｉｑｕｉｄ Ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｅｄ Ｃｚｏｃｈｒａｌｓｋｉ（液体カプセル法引上げ） 

ＬＥＤ Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ（発光ダイオード） 

ＬＥＭ Ｌｉｇｈｔ Ｅｌｅｍｅｎｔ Ｍｏｕｎｔｅｒ（光部品マウンター） 

ＬＩＤ Ｌｅａｄｌｅｓｓ Ｉｎｖｅｒｔｅｄ Ｄｅｖｉｃｅ（リードの無い樹脂シール型セラミック外囲器） 

ＬＬＣＰ Ｌｅａｄｌｅｓｓ Ｌｏｗ Ｃｏｓｔ Ｐａｃｋａｇｅ 

ＬＬＤ Ｌｅａｄｌｅｓｓ Ｄｉｏｄｅ（面実装タイプのダイオード） 

ＬＬＬ Ｌｏｗ Ｌｅｖｅｌ Ｌｏｇｉｃ 

ＬＯＣ Ｌｅａｄ ｏｎ Ｃｈｉｐ（半導体チップ上にリードを接着する方式） 

ＬＯＣＯＳ Ｌｏｃａｌ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｉｌｉｃｏｎ（選択酸化法） 

ＬＰ Ｌｉｎｅ Ｐｒｉｎｔｅｒ（ラインプリンタ） 

ＬＰ Ｌｉｎｅａｒ Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ（線形プログラミング） 

ＬＰ Ｌｉｓｔ Ｐｒｉｃｅ 

ＬＰＣＶＤ Ｌｏｗ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ＣＶＤ（減圧ＣＶＤ） 

ＬＰＤ Ｌｉｇｈｔ Ｐｏｉｎｔ Ｄｅｆｅｃｔ（明視野点欠陥） 

ＬＰＥ Ｌｉｑｕｉｄ Ｐｈａｓｅ Ｅｐｉｔａｘｙ（液相エピタキシャル） 

ＬＰＦ Ｌｏｗ Ｐａｓｓ Ｆｉｌｔｅｒ 

ＬＳ Ｌａｂｏｕｒ Ｓａｖｉｎｇ（労働省力） 

Ｌ／Ｓ Ｌｉｎｅ ａｎｄ Ｓｐａｃｅ（配線と線間寸法） 

ＬＳＢ Ｌｅａｓｔ Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ Ｂｉｔ（最下位ビット） 

ＬＳＩ Ｌａｒｇｅ Ｓｃａｌｅ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ（大規模集積回路） 

ＬＳＩＰ Ｌａｒｇｅ ＳＩＰ 

ＬＳＴＤ Ｌａｓｅｒ Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ Ｄｅｆｅｃｔ（赤外散乱体） 

ＬＳＴＴＬ Ｌｏｗ Ｐｏｗｅｒ Ｓｃｈｏｔｔｋｙ ＴＴＬ（低消費電力ショットキＴＴＬ） 



 ２０

ＬＴ Ｌｅａｄ Ｔｉｍｅ（製造工程間必要時間） 

ＬＴＰ Ｌｏｗ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ（低温度処理保護膜形成） 

ＬＴＰＤ Ｌｏｔ Ｔｏｌｅｒａｎｃｅ Ｐｅｒｃｅｎｔ Ｄｅｆｅｃｔｉｖｅ 

ＬＴＳＴ Ｌｉｑｕｉｄ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｓｈｏｃｋ Ｔｅｓｔ（液体熱衝撃試験） 

ＬＴＴ Ｌｉｇｈｔ Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ Ｔｈｙｒｉｓｔｏｒ（光点孤型サイリスタ） 

ＬＴＶ Ｌｏｃａｌ Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ Ｖａｒｉａｔｉｏｎ（セル寸法内の厚さバラツキ） 



 ２１

＊ Ｍ 

ＭＡ Ｍｉｃｒｏ Ａｓｓｅｍｂｌｙ（微細組立） 

Ｍ＆Ａ Ｍｅｒｇｅｒ ＆ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ（企業の合併・買収） 

ＭＡＣＨ－ＧＤ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ａｉｍｅｄ Ｃｏｍｐａｃｔ ＆ Ｈａｌｆ 

  ｂｙ Ｇｒａｎｄ Ｄｅｓｉｇｎ 

ＭＡＯＳ Ｍｅｔａｌ Ａｌｍｉｎａ Ｏｘｉｄｅ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ 

ＭＡＰ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（製造の自動化に関する通信規約） 

ＭＡＰＳ Ｍｉｘｅｄ Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ（混合組立生産システム） 

ＭＡＳ Ｍｅｔａｌ Ａｌｕｍｉｎａ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ（絶縁膜にアルミナを使った半導体） 

ＭＢ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｂｅｖｅｌ（砥石使用ベベル） 

ＭＢＡ Ｍａｓｔｅｒ ｏｆ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ（経営学修士） 

ＭＢＥ Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｂｅａｍ Ｅｐｉｔａｘｙ（分子線エピタキシャル法） 

ＭＢＯ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂｙ Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ（目標管理制度） 

ＭＣ Ｍａｃｈｉｎｉｎｇ Ｃｅｎｔｅｒ（複合加工工作機械） 

Ｍ／Ｃ Ｍａｃｈｉｎｅ（機械、装置） 

ＭＣＤ Ｍｏｔｏｒ Ｓｐｅｅｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ ＆ Ｄｒｉｖｅｒ 

ＭＣＬ Ｍｅｔａｌ Ｃｏｎｔａｍｉｎａｔｉｏｎ Ｌｅｖｅｌ（金属汚染レベル） 

ＭＣＭ Ｍｕｌｔｉｃｈｉｐ Ｍｏｄｕｌｅ（複数半導体チップ搭載モジュール） 

ＭＣＰ Ｍｕｌｔｉｃｈｉｐ Ｐａｃｋａｇｅ（複数半導体チップ搭載パッケージ） 

ＭＣＵ ＭｉｃｒｏＣｏｎｔｒｏｌｌｅｒ Ｕｎｉｔ（ワンチップマイコン） 

ＭＣＺ Ｍａｇｎｅｔｉｃ－ｆｉｅｌｄ－ａｐｐｌｉｅｄ Ｃｚｏｃｈｒａｌｓｋｉ（磁界印加引上げ） 

ＭＤ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｄａｔａ（標準部品データ） 

ＭＤ Ｍｉｎｉ Ｄｉｓｃ（小型光磁気ディスク） 

ＭＤＩ Ｍａｓｋ Ｄｅｆｅｃｔ Ｉｎｓｐｅｃｔｏｒ（マスク欠陥検査装置） 

ＭＤＴ Ｍｅａｎ Ｄｏｗｎ Ｔｉｍｅ（平均故障時間） 

ＭＤＴ Ｍｕｌｔｉ Ｄｉｇｉｔ Ｔｕｂｅ（多桁表示管） 

ＭＤＴＬ Ｍｏｄｉｆｉｅｄ Ｄｉｏｄｅ－Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｌｏｇｉｃ 

ＭＥ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ（管理工学） 

ＭＥ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ（医療工学） 

ＭＥ Ｍｉｃｒｏ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（微細電子工学） 

ＭＥＬＦ Ｍｅｔａｌ Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ Ｆａｃｅｂｏｎｄｉｎｇ（金属電極付き表面実装素子） 

ＭＥＭＳ Ｍｉｃｒｏ Ｅｌｅｃｔｒｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍ（微小電気機械システム） 

ＭＥＳ Ｍｅｔａｌ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ 

ＭＥＴ Ｍｅｓｈ Ｅｍｉｔｔｅｒ Ｔｒａｎｓｉｓｔｅｒ（網目状エミッタ型トランジスタ） 

ＭＦＣ Ｍａｓｓ Ｆｌｏｗ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ（流量制御装置） 

ＭＦＣ Ｍｏｌｄｅｄ Ｆｌｉｐ Ｃｈｉｐ 

ＭＦＧ－ＳＰＥＣ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（製造基準） 

ＭＦＰ Ｍｉｎｉ Ｆｌａｔ Ｐａｃｋａｇｅ（小型フラットパッケージ） 

ＭＨ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｈａｎｄｌｉｎｇ 

ＭＩＣ Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ（マイクロ波用ＩＣ） 

ＭＩＤＩ Ｍｕｓｉｃａｌ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ 

  （電子楽器やコンピュータ間で演奏データをやりとりするための規格） 



 ２２

ＭＩＬ－ＳＴＤ Ｍｉｌｉｔａｒｙ Ｓｔａｎｄａｒｄ（米国軍用標準） 

ＭＩＭ Ｍｅｔａｌ－Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ－Ｍｅｔａｌ（金属―絶縁物―金属の構造） 

ＭＩＰ Ｍｅｔａｌ Ｉｎｄｕｃｅｄ Ｐｉｔｔｉｎｇ 

ＭＩＰＳ Ｍｉｌｌｉｏｎ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ ｐｅｒ Ｓｅｃｏｎｄ（１秒間あたり１００万回の命令実行） 

ＭＩＳ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ（経営情報システム） 

ＭＩＳ Ｍｅｔａｌ Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ（ＭＯＳ構造の基本） 

ＭＩＴＩ Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｅ  

  ａｎｄ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ（通商産業省） 

ＭＬ Ｍｉｃｒｏ Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ（微細露光技術） 

ＭＬ Ｍｉｒｒｏｒ Ｌａｐ（鏡面研磨） 

ＭＬＳＷ Ｍｕｌｔｉ－Ｌａｙｅｒ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｗａｆｅｒ（多層シリコンウェーハ） 

ＭＭＩＣ Ｍｏｎｏｌｉｔｈｉｃ Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ ＩＣ（モノリシックマイクロ波ＩＣ） 

ＭＭＳＴ Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ 

 ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

ＭＭＸ ＭｕｌｔｉＭｅｄｉａ ｅＸｔｅｎｓｉｏｎ（マルチメディア機能拡張技術） 

ＭＮＯＳ Ｍｅｔａｌ Ｎｉｔｒｉｄｅ Ｏｘｉｄｅ  

  Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ（窒化膜と酸化膜をメタルの下に用いた半導体） 

ＭＯ Ｍａｇｎｅｔｏ Ｏｐｔｉｃａｌ ｄｉｓｋ（光磁気ディスク） 

ＭＯＣＶＤ Ｍｅｔａｌｏｒｇａｎｉｃ ＣＶＤ（有機金属化学気相成長法） 

ＭＯＤＥＭ Ｍｏｄｕｌａｔｏｒ Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｏｒ（データ伝送用変調・復調器） 

ＭＯＳ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＭＯＳ Ｍｅｔａｌ Ｏｘｉｄｅ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ（金属と酸化膜による半導体、通称：モス） 

ＭＰ Ｍａｓｓ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ（大量生産） 

ＭＰ Ｍｅｌｔｉｎｇ Ｐｏｉｎｔ（融点） 

ＭＰ Ｍｉｃｒｏ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ（小型プロセッサー） 

ＭＰ３ ＭＰＥＧ１ Ａｕｄｉｏ Ｌａｙｅｒ３（音声データの圧縮技術の国際規格） 

ＭＰＥＧ Ｍｏｖｉｎｇ Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｅｘｐｅｒｔ Ｇｒｏｕｐ（カラー動画像蓄積用符号化方式） 

ＭＰＳＯＬＮ Ｍｏｄｉｆｉｅｄ Ｐｌｉｓｋｉｎ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 

ＭＰＵ Ｍｉｃｒｏ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ（超小型演算処理装置） 

ＭＰＸ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ（多重化装置） 

ＭＱＷ Ｍｕｌｔｉ－Ｑｕａｎｔｕｍ Ｗｅｌｌ（多重量子井戸） 

ＭＲＣ Ｍｅｔａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｏ． 

ＭＲＩ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ Ｉｍａｇｉｎｇ（核磁気共鳴影像法） 

ＭＲＯＭ Ｍａｓｋ ＲＯＭ（露光用マスクで情報を書き込んだＲＯＭ） 

ＭＲＰ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ Ｐｌａｎｎｉｎｇ 

ＭＳＢ Ｍｏｓｔ Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ Ｂｉｔ（最上位ビット） 

ＭＳ－ＤＯＳ Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ－Ｄｉｓｋ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ（パソコンの標準ＯＳ） 

ＭＳＩ Ｍｅｄｉｕｍ Ｓｃａｌｅ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ（中規模集積回路） 

ＭＳＰ Ｍｉｃｒｏ Ｓｈａｌｌｏｗ Ｐｉｔ 

ＭＳＳ Ｍａｓｔｅｒ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｓｈｅｅｔ（主規格表） 

ＭＴ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｔａｐｅ（磁気テープ） 

ＭＴＢＦ Ｍｅａｎ Ｔｉｍｅ Ｂｅｔｗｅｅｎ Ｆａｉｌｕｒｅ（平均故障間隔時間） 



 ２３

ＭＴＬ Ｍｅｒｇｅｄ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｌｏｇｉｃ 

ＭＴＭ Ｍｅｔｈｏｄ Ｔｉｍｅ Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ（時間観測法） 

ＭＴＳ Ｍｕｌｔｉｔａｂｌｅｔ Ｍｏｌｄｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（マルチタブレット樹脂モールド装置） 

ＭＴＴＦ Ｍｅａｎ Ｔｉｍｅ ｔｏ Ｆａｉｌｕｒｅ（平均無故障稼動時間） 

ＭＴＴＲ Ｍｅａｎ Ｔｉｍｅ ｔｏ Ｒｅｐａｉｒ（修理までの平均時間） 

ＭＵＳＥ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｓｕｂ－ｎｙｑｕｉｓｔ Ｓａｍｐｌｅ Ｅｎｃｏｄｉｎｇ（映像信号帯域圧縮方式） 

ＭＵＸ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ（多重化装置） 

ＭＶＡ Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ Ｖｅｒｔｉｃａｌ Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ（改善された液晶の一種） 



 ２４

＊ Ｎ 

ＮＡ Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ Ａｐｅｒｔｕｒｅ（レンズ開口数） 

ＮＡＮＤ Ｎｏｔ ＡＮＤ（否定論理積） 

ＮＡＳＡ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃｓ ａｎｄ 

  Ｓｐａｃｅ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ（米国航空宇宙局） 

ＮＡＳＤＡ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｐａｃｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ａｇｅｎｃｙ 

  ｏｆ Ｊａｐａｎ（日本宇宙開発事業団） 

ＮＢ Ｎｅｕｔｒｏｎ Ｂｏｍｂａｒｄｍｅｎｔ 

ＮＣ Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ（数値制御） 

ＮＣＦ Ｎｏｎ Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ ｒｅｓｉｎ Ｆｉｌｍ（導電性粒子のない絶縁フィルム） 

ＮＣＰ Ｎｏｎ Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ ｒｅｓｉｎ Ｐａｓｔｅ（導電性粒子のない絶縁ペースト） 

ＮＣＳ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＮＤ Ｎｅｕｔｒｏｎ Ｄｏｐｉｎｇ（中性子によるドープ法） 

ＮＤＴ Ｎｏｎｄｅｓｔｒｕｃｔｉｖｅ Ｔｅｓｔｉｎｇ（非破壊試験） 

ＮＥＤＯ Ｎｅｗ Ｅｎｅｒｇｙ ａｎｄ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

  Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

ＮＥＧＡ Ｎｅｇａｔｉｖｅ Ｒｅｓｉｓｔ（ネガ型レジスト（感光剤）） 

ＮＥＭＡ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

ＮＥＲＩＭ Ｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｒｅｗｒｉｔａｂｌｅ 

 ＩＣ Ｍｅｍｏｒｙ（不揮発性書込み可能メモリ） 

ＮＦ Ｎｏｉｓｅ Ｆｉｇｕｒｅ（雑音指数） 

ＮＧＯ Ｎｏｎ Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔａｌ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（非政府間組織） 

ＮＨ Ｎａｉｌ Ｈｅａｄ（くぎの頭型） 

ＮＩＣＳ Ｎｅｗｌｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｉｚｉｎｇ Ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ（新興工業国地域群） 

ＮＩＥＳ Ｎｅｗｌｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｉｚｉｎｇ Ｅｃｏｎｏｍｉｅｓ（新興工業経済群） 

ＮＩＳ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＮＩＳＴ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ  

  ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（米国標準・技術研究所） 

ＮＭＯＳ Ｎｅｇａｔｉｖｅ－Ｃｈａｎｎｅｌ ＭＯＳ 

ＮＭＰ Ｎ－Ｍｅｔｈｙｌ－２－Ｐｙｒｒｏｌｉｄｏｎｅ 

ＮＭＲ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ（核磁気共鳴） 

ＮＯＸ Ｎｉｔｒｏｇｅｎ Ｏｘｉｄｅ Ｘ（窒素酸化物） 

ＮＳＡ Ｎｉｔｒｉｄｅ Ｓｅｌｆ Ａｌｉｇｎｅｄ Ｐｒｏｃｅｓｓ（窒化膜による自己整合化プロセス） 

ＮＳＳ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

ＮＴＣ Ｎｉｉｇａｔａ Ｔｏｓｈｉｂａ Ｃｅｒａｍｉｃｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 

ＮＴＤ Ｎｅｕｔｒｏｎ Ｔｒａｎｓｍｕｔａｔｉｏｎ Ｄｏｐｉｎｇ（中性子照射ドーピング） 

ＮＴＬ Ｎｏｎ Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ Ｌｏｇｉｃ 

ＮＴＲＳ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｒｏａｄｍａｐ ｆｏｒ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ 

ＮＴＳＣ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ（国際テレビシステム委員会）

ＮＶ Ｎｅｅｄｌｅ Ｖａｌｖｅ 

ＮＶＲＡＭ Ｎｏｎ Ｖｏｌａｔｉｌｅ ＲＡＭ（低電圧駆動不揮発性メモリ） 



 ２５

＊ Ｏ 

ＯＡ Ｏｆｆｉｃｅ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ（事務作業合理化） 

ＯＡＴ Ｏｘｉｄｅ Ａｌｉｇｎｅｄ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ 

ＯＢＩＣ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｂｅａｍ Ｉｎｄｕｃｅｄ Ｃｕｒｒｅｎｔ 

ＯＣ Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ 

ＯＣＤ Ｏｈｋａ Ｃｏａｔ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ Ｓｏｕｒｃｅ（東京応化塗布型拡散源） 

ＯＣＤ Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｄｅｖｉｃｅ（光結合素子） 

ＯＣＲ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ Ｒｅａｄｅｒ（光学式文字読取装置） 

ＯＤ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｄａｔａ（標準工程データ） 

ＯＤ Ｏｕｔｅｒ Ｄｉａｍｅｔｅｒ（外径） 

ＯＤＡ Ｏｆｆｉｃｉａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ（政府開発援助） 

ＯＤＵ Ｏｕｔ Ｄｏｏｒ Ｕｎｉｔ（衛星放送受信用屋外装置） 

ＯＥＥ Ｏｖｅｒａｌｌ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓ 

ＯＥＩＣ Ｏｐｔｏ－Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ（光電子ＩＣ） 

ＯＥＭ Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ（相手先ブランドでの生産） 

ＯＥＳ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（発光分光分析） 

ＯＦ Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ Ｆｌａｔ 

ＯＨＰ Ｏｖｅｒ Ｈｅａｄ Ｐｒｏｊｅｃｔｏｒ 

ＯＨＴ Ｏｖｅｒｈｅａｄ Ｈｏｉｓｔ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ（天井走行搬送） 

ＯＩ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｉｓｏｌａｔｏｒ 

ＯＪＢ Ｏｖｅｒ Ｊｕｎｃｔｉｏｎ Ｂｏｎｄｉｎｇ（チップの接合上ボンディング） 

ＯＪＴ Ｏｎ ｔｈｅ Ｊｏｂ Ｔｒａｉｎｉｎｇ（業務中訓練） 

ＯＬＢ Ｏｕｔｅｒ Ｌｅａｄ Ｂｏｎｄｅｒ（ＴＡＢの外部リードボンディング装置） 

ＯＬＬＭ Ｏｎ－Ｌｉｎｅ Ｌａｙｏｕｔ Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ 

ＯＭＲ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｍａｒｋ Ｒｅａｄｅｒ（光学式マーク読取装置） 

ＯＰＣ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｐｈｏｔｏ Ｃｏｕｐｌｅｒ（ＬＥＤを使用した無接点リレー） 

ＯＰＣ Ｏｒｇａｎｉｃ Ｐｈｏｔｏｃｏｎｄｕｃｔｏｒ（有機光導電体） 

ＯＰＥＣ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ 

  Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ（太平洋地域経済協力機構） 

ＯＰＰ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｐｒｅｃｉｐｉｔａｔｅ Ｐｒｏｆｉｌｅｒ（赤外干渉法） 

ＯＲ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ 

ＯＳ Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＯＳ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ ＆ Ｓｉｒｔｌ 

ＯＳＣ Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ（発振） 

ＯＳＥ Ｏｎｅ Ｓｉｄｅ Ｅｔｃｈｉｎｇ（片面エッチング） 

ＯＳＥ Ｏｒｉｅｎｔ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｌｔｄ． 

ＯＳＦ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ Ｉｎｄｕｃｅｄ Ｓｔａｃｋｉｎｇ Ｆａｕｌｔ（酸化誘起積層欠陥） 

ＯＳＬ Ｏｎｅ Ｓｉｄｅ Ｌａｐｐｅｄ（片面ラップド） 

ＯＸ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ（酸化） 



 ２６

＊ Ｐ 

ＰＡ Ｐｒｏｄｕｃｔ Ａｎａｌｙｓｉｓ 

ＰＡＡＳ Ｐｌａｓｔｉｃ Ｐｏｗｅｒ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ 

 Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＰＡＣ Ｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ ｏｎ ＩＣ 

ＰＡＣ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ ＆ Ｃｏｎｔｒｏｌ 

ＰＡＣＥ Ｐｌａｓｍａ Ａｓｓｉｓｔｅｄ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｅｔｃｈｉｎｇ 

ＰＡＬ Ｐｈａｓｅ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｏｎ ｂｙ Ｌｉｎｅ（テレビの信号伝送のパル方式） 

ＰＡＬＣ Ｐｌａｓｍａ Ａｄｄｒｅｓｓ Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ（プラズマアドレス液晶） 

ＰＡＭ Ｐｕｌｓｅ Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（パルス振幅変調） 

ＰＡＰ Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｖｉｃｅ Ａｌｌ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ Ｐｌａｎ 

ＰＡＲＣＯＲ Ｐａｒｔｉａｌ Ａｕｔｏ Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ（偏自己相関係数方式） 

ＰＡＴ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ａｐｐｒｏｖａｌ Ｔｅｓｔ（生産認定試験） 

ＰＡＴＯＬＩＳ Ｐａｔｅｎｔ Ｏｎｌｉｎｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ（特許のオンラインデータベース） 

ＰＢＮ Ｐｙｒｏｌｙｔｉｃ Ｂｏｒｏｎ Ｎｉｔｒｉｄｅ 

ＰＢＳ Ｐｏｌｙ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｂａｃｋｓｉｄｅ Ｓｅａｌ（ポリシリコンによるウェーハ裏面コート） 

ＰＢＴ Ｐｏｌｙ Ｂｕｔｙｌｅｎｅ Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ（ポリブチレンテレフタレート） 

ＰＢＸ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂｒａｎｃｈ ｅＸｃｈａｎｇｅ（構内電話交換機） 

ＰＣ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ（パーソナルコンピュータ、パソコン） 

ＰＣ Ｐｏｌｙ Ｃａｒｂｏｎａｔｅ（ポリカーボネート） 

ＰＣ Ｐｒｉｎｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ（回路基板） 

ＰＣ Ｐｒｏｐｏｓａｌ ｆｏｒ Ｃｈａｎｇｅ 

ＰＣＢ Ｐｏｌｙ Ｃｈｌｏｒｉｎａｔｅｄ Ｂｉｐｈｅｎｙｌ（ポリ塩化ビフェニル） 

ＰＣＢ Ｐｒｉｎｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ Ｂｏａｒｄ（プリント基板） 

ＰＣＢＴ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｃｏｏｋｅｒ Ｂｉａｓ Ｔｅｓｔ 

ＰＣＤ Ｐｌａｓｍａ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｄｅｖｉｃｅ（プラズマ結合型素子） 

ＰＣＤ Ｐｉｔｃｈ Ｃｉｒｃｌｅ Ｄｉａｍｅｔｅｒ 

ＰＣＭ Ｐｒｅｃｉｓｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｍｏｌｄｉｎｇ（精密制御モールド） 

ＰＣＭ Ｐｕｌｓｅ Ｃｏｄｅ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（パルス符号変調） 

ＰＣＳ Ｐｕｎｃｈ Ｃａｒｄ Ｓｙｓｔｅｍ（パンチカードシステム） 

ＰＣＴ Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｅｖｉｃｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（完全結晶による製造技術） 

ＰＣＴ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｃｏｏｋｅｒ Ｔｅｓｔ（圧力釜試験） 

ＰＤ Ｐｏｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ（ポッティングダイオード） 

ＰＤＡ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ（個人用携帯型情報端末） 

ＰＤＣ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｅｌｌｕｌａｒ（セルラーホンの通信方式） 

ＰＤＦ Ｐｏｒｔａｂｌｅ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｆｏｒｍａｔ（電子ドキュメントファイル方式） 

ＰＤＰ Ｐｌａｓｍａ Ｄｉｓｐｌａｙ Ｐａｎｅｌ（プラズマ型平面表示装置） 

ＰＥ Ｐｈｏｔｏ Ｅｎｇｒａｖｉｎｇ（写真食刻） 

ＰＥ ＰｏｌｙＥｔｈｙｌｅｎｅ（ポリエチレン） 

ＰＥＢ Ｐｏｓｔ Ｅｘｐｏｓｕｒｅ Ｂａｋｅ（露光後ベーク） 

ＰＥＥＫ Ｐｏｌｙ－ｅｔｈｅｒ－ｅｔｈｅｒ Ｋｅｔｏｎｅ（ポリエーテルエーテルケトン） 

ＰＥＥＬ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ 



 ２７

ＰＥＰ Ｐｈｏｔｏ Ｅｎｇｒａｖｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ（写真食刻プロセス） 

ＰＥＲＴ Ｐｒｏｇｒａｍ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｒｅｖｉｅｗ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ（科学的工程管理法） 

ＰＥＳ Ｐｏｌｙ Ｅｔｈｅｒ Ｓｕｌｆｏｎｅ 

ＰＥＴ Ｐｏｌｙ Ｅｔｈｙｌｅｎｅ Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ（ＰＥＴボトルなど） 

ＰＦＣ Ｐｅｒｆｌｕｏｒｏｃａｒｂｏｎ（代替フロン） 

ＰＧ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｇａｕｇｅ（圧力計） 

ＰＧＡ Ｐｉｎ Ｇｒｉｄ Ａｒｒａｙ（リード挿入型多ピン外囲器） 

ＰＧＶ Ｐｅｒｓｏｎ Ｇｕｉｄｅｄ Ｖｅｈｉｃｌｅ（作業者運転搬送車） 

ＰＨＳ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ Ｓｙｓｔｅｍ （簡易型携帯電話） 

ＰＩ Ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ（ポリイミド） 

ＰＩ Ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ Ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ 

ＰＩＣ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ＆ Ｂｅｔｔｅｒ Ｃｏｎｔｒｏｌ 

ＰＩＭ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｒ（個人情報管理機能の総称） 

ＰＩＱ Ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ Ｉｓｏｉｎｄｌｏ Ｑｕｉｎａｓｏｌｉｎｚｉｏｎ 

ＰＫＧ Ｐａｃｋａｇｅ（外囲器） 

ＰＫＳ Ｐｏｌｙｋｅｔｏｎｅ Ｓｕｌｆｉｄｅ 

ＰＬ Ｐｈｏｔｏ Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ（光励起発光法） 

ＰＬ Ｐｒｏｄｕｃｔ（ｓ） Ｌｉａｂｉｌｉｔｙ（製造物責任、製品責任） 

ＰＬ Ｐｒｏｆｉｔ ｏｒ Ｌｏｓｓ（損益） 

ＰＬＡ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ Ａｒｒａｙ 

ＰＬＡＳ Ｈｉｇｈ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｂｉｐｏｌａｒ ＬＳＩ Ｐｒｏｃｅｓｓ 

 ｆｏｒ Ａｎａｌｏｇ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＰＬＣＣ Ｐｌａｓｔｉｃ Ｌｅａｄｅｄ Ｃｈｉｐ Ｃａｒｒｉｅｒ 

ＰＬＤ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ Ｄｅｖｉｃｅ（プログラム可能な論理素子） 

ＰＬＬ Ｐｈａｓｅ Ｌｏｃｋｅｄ Ｌｏｏｐ（定周波発振方式の一つ） 

ＰＬＰ Ｐｒｏｄｕｃｔ（ｓ） Ｌｉａｂｉｌｉｔｙ Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ（製造物責任予防） 

ＰＭ Ｐｈａｓｅ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（位相変調） 

ＰＭ Ｐｒｅｖｅｎｔｉｖｅ Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ（予防保守） 

ＰＭＡ Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｍａｒｋｅｔ Ａｎａｌｙｓｉｓ 

ＰＭＤＣ Ｐｒｅｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏｕｒｓｅ 

ＰＭＭＡ Ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ（メタアクリル酸メチル） 

ＰＭＯＳ Ｐｏｓｉｔｉｖｅ－Ｃｈａｎｎｅｌ ＭＯＳ（Ｐチャンネル型ＭＯＳ） 

ＰＯ Ｐｏｓｔａｌ Ｏｒｄｅｒ（郵便為替） 

ＰＯＥＭ Ｐｌａｎａｒｉｚｅｄ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｏｘｉｄｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

 ｆｏｒ Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｍｕｌｔｉｌｅｖｅｌ Ｍｅｔａｌｉｚａｔｉｏｎ 

ＰＯＰ Ｐｏｓｔ Ｏｆｆｉｃｅ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（メールを保管したり取り出すための処理手順） 

ＰＯＳ Ｐｏｉｎｔ ｏｆ Ｓａｌｅｓ（販売時点情報管理） 

ＰＯＳＩ Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｒｅｓｉｓｔ（ポジ型レジスト（感光剤）） 

ＰＯＳＴ Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ Ｓｈａｌｌｏｗ Ｔｒｅｎｃｈ 

ＰＰ Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ（ポリプロピレン） 

ＰＰＡ Ｐｒｅｐｒｏｄｕｃｔ Ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ Ａｎａｌｙｓｉｓ 

ＰＰＢＳ Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ Ｂｕｄｇｅｔｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（企画計画予算制度） 



 ２８

ＰＰＣ Ｐｌａｉｎ Ｐａｐｅｒ Ｃｏｐｉｅｒ（普通紙複写機） 

ｐｐｍ Ｐａｒｔｓ Ｐｅｒ Ｍｉｌｌｉｏｎ（百万分率） 

ＰＰＭ Ｐｒｉｎｔｓ Ｐｅｒ Ｍｉｎｕｔｅ（１分当たりのプリント枚数） 

ＰＰＭ Ｐｕｌｓｅ Ｐｏｓｉｔｉｏｎ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（パルス位置変調） 

ＰＰＰｏＥ Ｐｏｉｎｔ ｔｏ Ｐｏｉｎｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ  

  ｏｖｅｒ Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（PPの機能をEthernetを通して利用するためのプロトコル） 

ＰＰＳ Ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅ Ｓｕｌｆｉｄｅ 

ｐｐｔ Ｐａｒｔｓ Ｐｅｒ Ｔｒｉｌｌｉｏｎ（１兆分率） 

ＰＰＵ Ｐｒｅ Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｕｎｉｔ 

ＰＲＯＭ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ（書込み可能ＲＯＭ） 

ＰＲＯＸ Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ（接近露光法） 

ＰＳＡ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｓｗｉｎｇ Ａｄｓｏｒｐｔｉｏｎ 

ＰＳＦ Ｐ－ＩＦ Ｓｕｒｆａｃｅ－ｗａｖｅ Ｆｉｌｔｅｒ（映像中間周波表面波フィルタ） 

ＰＳＧ Ｐｈｏｓｐｈｏ－Ｓｉｌｉｃａｔｅ Ｇｌａｓｓ（リン・ケイ酸ガラス） 

ＰＳＩ Ｐｏｕｎｄｓ ｐｅｒ Ｓｑｕａｒｅ Ｉｎｃｈ（平方インチ当たりポンド） 

ＰＳＩＤ Ｐｈｏｔｏｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ Ｌａｙｅｒｅｄ Ｓｏｌｉｄ Ｓｔａｔｅ 

 Ｉｍａｇｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ 

ＰＳＬ Ｐｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ Ｌａｔｅｘ（ポリスチレンラテックス） 

ＰＴＨ Ｐｌａｔｅｄ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｈｏｌｅ（メッキ付きスルーホール） 

ＰＴＰ Ｐａｐｅｒ Ｔｈｉｎ Ｐａｃｋａｇｅ（紙より薄いパッケージ） 

ＰＴＳ Ｐｒｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ Ｔｉｍｅ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ 

ＰＵＡ Ｐｅｒｃｅｎｔ ｏｆ Ｕｓａｂｌｅ Ａｒｅａ（半導体チップの使用可能域率） 

ＰＶＣ Ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｃｈｌｏｒｉｄｅ（ポリ塩化ビニール ） 

ＰＶＤ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ（物理的蒸着法） 

ＰＷＢ Ｐｒｉｎｔｅｄ Ｗｉｒｉｎｇ Ｂｏａｒｄ（プリント基板） 

ＰＷＭ Ｐｕｌｓｅ Ｗｉｄｔｈ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（パルス幅変調） 

ＰＹ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｙｉｅｌｄ（工程歩留） 



 ２９

＊ Ｑ 

ＱＡ Ｑｕａｌｉｔｙ Ａｓｓｕｒａｎｃｅ（品質保証） 

ＱＡＴ Ｑｕａｌｉｔｙ Ａｐｐｒｏｖａｌ Ｔｅｓｔ（品質認定試験） 

ＱＣ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ（品質管理） 

ＱＣＤ Ｑｕａｌｉｔｙ， Ｃｏｓｔ， Ｄｅｌｉｖｅｒｙ（品質、価格、納期） 

ＱＣＳ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｓｔａｎｄａｒｄ（品質管理標準） 

ＱＤＣ Ｑｕｉｃｋ Ｄｉｅ Ｃｈａｎｇｅｒ（簡単金型交換装置） 

ＱＦＤ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｄｅｐｌｏｙｍｅｎｔ（品質機能展開） 

ＱＦＪ Ｑｕａｄ Ｆｌａｔ Ｊ－ｌｅａｄｅｄ Ｐａｃｋａｇｅ（ＰＬＣＣ） 

ＱＦＮ Ｑｕａｄ Ｆｌａｔ Ｎｏｎ－ｌｅａｄｅｄ Ｐａｃｋａｇｅ（リードなしＱＦＰ） 

ＱＦＰ Ｑｕａｄ Ｆｌａｔ Ｐａｃｋａｇｅ（表面実装型４方向リード外囲器） 

ＱＩＬ Ｑｕａｄ Ｉｎｌｉｎｅ Ｐａｃｋａｇｅ ＬＳＩ 

ＱＭＲＳ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ Ｒｅｔｒｉｅｖａｌ Ｓｙｓｔｅｍ（品質情報検索システム） 

ＱＳＳ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｃｈａｒｇｅ Ｄｅｎｓｉｔｙ（表面電荷密度） 

ＱＴＡＴ Ｑｕｉｃｋ Ｔｕｒｎ Ａｒｏｕｎｄ Ｔｉｍｅ（製品開発・試作期間短縮） 

ＱＶＩＰ Ｑｕａｌｉｔｙ－Ｖｅｒｙ Ｉｍｐｏｒｔａｎｔ Ｐｒｏｂｌｅｍ 



 ３０

＊ Ｒ 

ＲＡ Ｒｅｃｔｉｆｉｅｒ Ａｓｓｅｍｂｌｙ（整流素子組立製品） 

ＲＡＭ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｒｅａｄ Ｗｒｉｔｅ Ｍｅｍｏｒｙ（随意読出し・書込み可能メモリ） 

ＲＡＳ Ｒｅｍｏｔｅ Ａｃｃｅｓｓ Ｓｅｒｖｅｒ（遠隔接続サーバ） 

ＲＣＪ Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ Ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ 

  Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ ｏｆ Ｊａｐａｎ（日本電子部品信頼性センター） 

ＲＣＳＰ Ｒｅａｌ Ｃｈｉｐ Ｓｉｚｅ Ｐａｃｋａｇｅ（真のチップ大パッケージ） 

ＲＣＴ Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ Ｔｈｙｒｉｓｔｏｒ（逆導通サイリスタ） 

ＲＤ Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ（東芝半本規定） 

ＲＥＳＵＲＦ Ｒｅｄｕｃｅｄ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｆｉｅｌｄ 

ＲＥＧ Ｒｅｇｕｌａｒ Ｌｉｆｅ Ｔｅｓｔ（通常寿命試験） 

ＲＥＬ Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ 

ＲＦ Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ（無線周波数） 

ＲＦＰ Ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ Ｆｉｅｌｄ Ｐｌａｔｅ 

ＲＧＢ Ｒｅｄ， Ｇｒｅｅｎ， Ｂｌｕｅ（光の３原色） 

ＲＨ Ｒｅｌａｔｉｖｅ Ｈｕｍｉｄｉｔｙ（相対湿度） 

ＲＩ Ｒａｄｉｏ Ｉｓｏｔｏｐｅ（放射性同位元素） 

ＲＩＥ Ｒｅａｃｔｉｖｅ Ｉｏｎ Ｅｔｃｈｉｎｇ（反応性イオンエッチング） 

ＲＩＭ Ｒｅａｃｔｉｏｎ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｍｏｌｄｉｎｇ 

ＲＩＳＣ Ｒｅｄｕｃｅｄ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｓｅｔ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ（縮小命令セットコンピュータ） 

ＲＬＧ Ｒａｄｉｏｌｕｍｉｎｏｇｒａｐｈｙ 

ＲＯ Ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ Ｏｓｍｏｓｉｓ（逆浸透） 

ＲＯＥ Ｒｅｔｕｒｎ Ｏｎ Ｅｑｕｉｔｙ（株主資本利益率） 

ＲＯＩ Ｒｅｔｕｒｎ ｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（投資収益率） 

ＲＯＭ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ（読み出し専用メモリー） 

ＲＯＳ Ｒｅｔｕｒｎ ｏｎ Ｓａｌｅｓ（売上高収益率） 

ＲＰＧ Ｒｏｌｌ Ｐｌａｔｉｎｇ Ｇａｍｅ（ロールプレーイングゲーム） 

ＲＰＭ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｐｅｒ Ｍｉｎｕｔｅ（１分当たりの回転数） 

ＲＰＴ Ｒａｗ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｔｉｍｅ（実質工程時間） 

ＲＲＯＭ Ｒｅｗｒｉｔａｂｌｅ ＲＯＭ（再書き込み可能ＲＯＭ） 

ＲＳ Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ（東芝半本規定） 

ＲＳＭ Ｒａｎｄｏｍ Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ Ｍｅｍｏｒｙ 

ＲＴ Ｒｏｏｍ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ（室内温度） 

ＲＴＡ Ｒａｐｉｄ Ｔｈｅｒｍａｌ Ａｎｎｅａｌｉｎｇ（急速加熱アニール） 

ＲＴＯ Ｒａｐｉｄ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ（急速高温酸化） 

ＲＴＰ Ｒａｐｉｄ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ（急速加熱処理） 

ＲＴＲ Ｒｅａｄｙ ｔｏ Ｒｕｎ 

ＲＴＶ Ｒｏｏｍ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｖｕｌｃａｎｉｚａｔｉｏｎ（室温硫化型） 

ＲＶ Ｒｅｃｒｅａｔｉｏｎａｌ Ｖｅｈｉｃｌｅ（レクリエーション用自動車） 



 ３１

＊ Ｓ 

ＳＡ Ｓｏｃｉｅｔｅ Ａｎｏｎｙｍｅ（仏：株式会社） 

ＳＡＢＩＳ Ｓｔａｎｄ Ａｌｏｎｅ Ｂｒｅａｋｅｒｌｅｓｓ Ｉｇｎｉｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＳＡＣ Ｓｅｌｆ Ａｌｉｇｎ Ｃｏｎｔａｃｔ（自己整合法による取出し電極用開口部） 

ＳＡＧ Ｓｅｌｆ Ａｌｉｇｎｉｎｇ Ｇａｔｅ（ゲート自己整合構造） 

ＳＡＩＮＴ Ｓｅｌｆ Ａｌｉｇｎ Ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｎ＋ Ｌａｙｅｒ 

 Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

ＳＡＬ Ｓｅｌｆ Ａｌｉｇｎｅｄ Ｉ２Ｌ（自己整合Ｉ２Ｌ） 

ＳＡＭ Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ（磁気テープのようなメモリ） 

ＳＡＭＯＳ Ｓｔａｃｋｅｄ Ｇａｔｅ Ａｖａｌａｎｃｈｅ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ ＭＯＳ 

ＳＡＲ Ｓｅｇｍｅｎｔ Ａｄｄｒｅｓｓ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（セグメントの番地を示すレジスタ） 

ＳＡＷ Ｓｕｒｆａｃｅ Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｗａｖｅ（表面弾性波） 

ＳＢＣ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｂｕｒｉｅｄ Ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ（埋込みコレクタを使用するＩＣの標準構造） 

ＳＢＤ Ｓｃｈｏｔｔｋｙ Ｂａｒｒｉｅｒ Ｄｉｏｄｅ（ショットキバリヤダイオード） 

ＳＢＩＲ Ｓｉｔｅ， Ｂａｃｋｓｕｒｆａｃｅ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ， Ｉｄｅａｌ ｐｌａｎｅ， Ｒａｎｇｅ 

ＳＢＭ Ｓｙｓｔｅｍ Ｂｌｏｃｋ Ｍｏｄｕｌｅ（積層化高密度モジュール） 

ＳＢＴ Ｓｃｈｏｔｔｋｙ Ｂａｒｒｉｅｒ Ｇａｔｅ ＦＥＴ 

ＳＣ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｅｌｌ（スタンダードセル） 

ＳＣ１ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｌｅａｎｉｎｇ １（半導体標準洗浄法の一つ） 

ＳＣＡ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｃｈａｒｇｅ Ａｎａｌｙｚｅｒ（表面帯電測定装置） 

ＳＣＣＭ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｕｂｉｃ Ｃｅｎｔｉｍｅｔｅｒ ｐｅｒ Ｍｉｎｕｔｅｓ（cm３／分） 

ＳＣＭ Ｓｕｐｅｒｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ Ｍａｇｎｅｔ（超電導磁石） 

ＳＣＭ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 

ＳＣＲ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｒｅｃｔｉｆｉｅｒ（サイリスタ） 

ＳＣＲ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｒｅｃｔｉｆｉｅｒ（シリコン制御整流素子） 

ＳＣＳＩ Ｓｍａｌｌ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｓｙｓｔｅｍ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（スカジー：周辺機器接続規格） 

ＳＤ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｄｅｖｉａｔｉｏｎ（標準偏差） 

ＳＤＲＡＭ Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ ＤＲＡＭ（クロックに同期して動作する高速ＤＲＡＭ） 

ＳＥ Ｓｙｓｔｅｍ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ（コンピュータシステムの設計者） 

ＳＥＡＪ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

  ｏｆ Ｊａｐａｎ（社団法人 日本半導体製造装置協会） 

ＳＥＣ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｅｘｐｏｒｔ Ｃｏｎｔｒｏｌ 

ＳＥＣＡＭ Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ Ｃｏｌｏｕｒｓ Ａ Ｍｅｍｏｉｒｅ（テレビ放送方式の一つ） 

ＳＥＣＳ ＳＥＭＩ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ 

ＳＥＬＥＴＥ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｌｅａｄｉｎｇ Ｅｄｇｅ  

  Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（半導体先端テクノロジーズ） 

ＳＥＭ Ｓｃａｎｎｉｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ（走査型電子顕微鏡） 

ＳＥＭ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ（表面電子顕微鏡） 

ＳＥＭＡＴＥＣＨ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

  Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ（米国半導体技術開発組織） 

ＳＥＭＩ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ＆ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ 

  Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（国際半導体製造装置・材料協会） 
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ＳＥＰＯＸ Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ Ｐｏｌｙ－Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ 

ＳＦ Ｓｐｉｒａｌ Ｆｌｏｗ（渦巻き状流れ） 

ＳＦＱＤ Ｓｉｔｅ， Ｆｒｏｎｔｓｕｒｆａｃｅ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ，  

  ｓｉｔｅ ｌｅａｓｔ ｓＱｕａｒｅｓ， Ｄｅｖｉａｔｉｏｎ 

ＳＦＱＲ Ｓｉｔｅ， Ｆｒｏｎｔｓｕｒｆａｃｅ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ， 

 ｓｉｔｅ ｌｅａｓｔ ｓＱｕａｒｅｓ， Ｒａｎｇｅ 

ＳＧ Ｓｌｉｄｅ Ｇａｔｅ（スライドゲート） 

ＳＨ Ｓｕｌｐｈｅｒｉｃ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ Ｐｅｒｏｘｉｄｅ 

ＳＨＡ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｈｉｇｈ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ａｉｒ（特別高圧縮空気） 

ＳＩ Ｓａｍｐｌｉｎｇ Ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ（抜取り検査） 

ＳＩ Ｓｕｐｅｒ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ（超集積化） 

ＳＩ Ｓｙｓｔｅｍｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｅ ｄ‘Ｕｎｉｔｅｓ（仏：国際単位系） 

ＳＩＡ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（米国半導体工業会） 

ＳＩＣＡＳ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＣＡｐａｃｉｔｙ 

  Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ（世界半導体生産キャパシティ統計） 

ＳＩＣＯＳ Ｓｉｄｅｗａｌｌ Ｂａｓｅ Ｃｏｎｔａｃｔ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ 

ＳＩＭＯＸ Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ ｂｙ Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ  

 Ｏｘｙｇｅｎ（シリコン中に酸素を打込み酸化膜を形成する方法） 

ＳＩＭＳ Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ Ｉｏｎ Ｍａｓｓ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（二次イオン質量分析法） 

ＳＩＯ Ｓｌｏｗ－Ｉｎ， Ｓｌｏｗ－Ｏｕｔ 

ＳｉＰ Ｓｙｓｔｅｍ ｉｎ Ｐａｃｋａｇｅ（既存のチップを組合す高密度化） 

ＳＩＰ Ｓｉｎｇｌｅ Ｉｎｌｉｎｅ Ｐａｃｋａｇｅ（一方向にリードが出ている外囲器） 

ＳＩＰＩＣ Ｓｅｍｉ－Ｗｅｌｌ Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ ＆ Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ Ｐｏｌｙ－Ｓｉ 

 Ｐｒｏｃｅｓｓ ｆｏｒ Ｈｉｇｈ Ｖｏｌｔａｇｅ ＩＣ 

ＳＩＰＯＣ Ｓｅｍｉ－Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ Ｐｏｌｙ－Ｃａｒｂｏｒｕｎｄｕｍ 

ＳＩＰＯＳ Ｓｅｍｉ－Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ Ｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ Ｓｉｌｉｃｏｎ 

ＳＩＲＩＪ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ 

  Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ Ｊａｐａｎ（半導体産業研究所） 

ＳＩＳ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ ｏｎ Ｉｎｓｕｌａｔｉｎｇ Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ 

ＳＩＴ Ｓｔａｔｉｃ ｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙ Ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（静電誘導トラ） 

ＳＬ Ｓｅｅｄ Ｌｉｆｔｉｎｇ Ｓｐｅｅｄ（結晶引上げ速度） 

ＳＬＴ Ｓｉｎｇｌｅ Ｌａｎｅ Ｔｒａｎｓｉｔ（自動運転軌道シャトルバス） 

ＳＬＴ Ｓｏｌｉｄ Ｌｏｇｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（固体論理技術） 

ＳＭＣ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｍｏｕｎｔ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ 

ＳＭＤ Ｓｉｍｐｌｅ Ｍｏｌｄ Ｄｉｅ（簡易モールド金型） 

ＳＭＤ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｍｉｃｒｏ Ｄｅｆｅｃｔ（ウェーハ表面微小欠陥） 

ＳＭＤ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｍｏｕｎｔ Ｄｅｖｉｃｅ（表面実装素子） 

ＳＭＩ Ｓｔａｎｆｏｒｄ Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ Ｉｎｃ． 

ＳＭＩＦ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ 

ＳＭＰＤ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｍｉｃｒｏ Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ ＆ Ｄｅｆｅｃｔｓ（表面微小パーティクルと欠陥） 

ＳＭＱ Ｓｕｐｅｒ Ｍｉｎｉ Ｑｕａｄ Ｌｅａｄ 

ＳＭＴ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｍｏｕｎｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（面実装技術） 



 ３３

ＳＭＴＰ Ｓｉｍｐｌｅ Ｍａｉｌ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（メールの送受に必要な処理手順） 

ＳＮ Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚｉｎｇ Ｎｏｔｉｃｅ（標準化通知書） 

Ｓ／Ｎ Ｓｉｇｎａｌ ｔｏ Ｎｏｉｓｅ Ｒａｔｉｏ（信号対雑音比） 

ＳｏＣ Ｓｙｓｔｅｍ ｏｎ Ｃｈｉｐ（システムの機能全体を１チップに納めたLＳＩ） 

ＳＯＧ Ｓｅａ ｏｆ Ｇａｔｅ（全面素子形成型ゲートアレイ） 

ＳＯＧ Ｓｐｉｎ ｏｎ Ｇｌａｓｓ（シリカ系化合物による凹部の平坦化法） 

ＳＯＨＯ Ｓｍａｌｌ Ｏｆｆｉｃｅ Ｈｏｍｅ Ｏｆｆｉｃｅ（小事務所や自宅を仕事場とする環境） 

ＳＯＩ Ｓｉｌｉｃｏｎ ｏｎ Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ（絶縁材料の上にシリコンを形成したウェーハ） 

ＳＯＪ Ｓｍａｌｌ Ｏｕｔｌｉｎｅ Ｊ－ｌｅａｄｅｄ Ｐａｃｋａｇｅ 

ＳＯＰ Ｓｍａｌｌ Ｏｕｔｌｉｎｅ Ｐａｃｋａｇｅ（表面実装型小型外囲器） 

ＳＯＰ Ｓｙｓｔｅｍ ｏｎ Ｐａｎｅｌ（液晶ガラス上にメモリーなどのＬＳＩを一体化したもの） 

ＳＯＲ Ｓｙｎｃｈｒｏｔｒｏｎ Ｏｒｂｉｔａｌ Ｒａｄｉａｔｉｏｎ（シンクロトロン放射） 

ＳＯＳ Ｓｉｌｉｃｏｎ ｏｎ Ｓａｐｐｈｉｒｅ（サファイア基板上シリコン） 

ＳＯＸ Ｓｕｌｆｕｒ Ｏｘｙｇｅｎ Ｘ（硫黄酸化物） 

ＳＰ Ｓａｌｅｓ Ｐｒｉｃｅ（売価） 

ＳＰＣ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ（統計的プロセス管理） 

ＳＰＣ Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ（戦略的生産管理） 

ＳＰＥＣ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（規格） 

ＳＰＬ Ｓａｍｐｌｅ（サンプル、見本） 

ＳＰＭ Ｓｃａｎｎｉｎｇ Ｐｒｏｂｅ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ（走査型プローブ顕微鏡） 

ＳＰＶ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｇｅ（表面光電位法） 

ＳＱＣ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ（統計的品質管理） 

ＳＲ Ｓｅｅｄ Ｒｏｔａｔｉｏｎ（シード回転） 

ＳＲ Ｓｈｉｆｔ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（シフトレジスター） 

ＳＲ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｒｅｃｔｉｆｉｅｒ（シリコン整流素子） 

ＳＲ Ｓｐｒｅａｄｉｎｇ Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ（広がり抵抗） 

ＳＲ Ｓｙｎｃｈｒｏｔｒｏｎ Ｒａｄｉａｔｉｏｎ（シンクロトロン放射） 

ＳＲＡＭ Ｓｔａｔｉｃ ＲＡＭ（記憶保持操作がいらない、読出し・書込み可能メモリ） 

ＳＲＭＩ Ｓｕｒｆａｃｅ ｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ ｖｅｌｏｃｉｔｙ Ｒｅｌａｔｅｄ 

 Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ 

ＳＳ Ｓｏｃｉｅｔｙ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ 

ＳＳ Ｓｙｓｔｅｍ Ｓｏｆｔｗａｒｅ 

ＳＳＡ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｓａｆｅｔｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（半導体安全協会） 

ＳＳＢ Ｓｉｎｇｌｅ Ｓｉｄｅ Ｂａｎｄ（片側抑圧搬送波） 

ＳＳＩ Ｓｍａｌｌ Ｓｃａｌｅ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ（小規模集積回路） 

ＳＳｉ Ｓｕｐｅｒ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ 

 Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ Ｃｏ．（スーパーシリコン研究所） 

Ｓ２Ｌ Ｓｅｌｆ Ａｌｉｇｎｅｄ Ｓｕｐｅｒ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌｏｇｉｃ 

ＳＳＯＲ Ｓｏｌｉｄ Ｓｔａｔｅ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｒｅｌａｙ（固体光リレー） 

ＳＳＱＡ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｓｕｐｐｌｉｅｒ Ｑｕａｌｉｔｙ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ（供給者品質監査標準） 

ＳＳＲ Ｓｅｒｉａｌ Ｓｈｉｆｔ Ｒｅｓｉｓｔｅｒ 

ＳＳＲ Ｓｏｌｉｄ Ｓｔａｔｅ Ｒｅｌａｙ（固体リレー） 
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ＳＳＳ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃａｌ Ｓｗｉｔｃｈ 

Ｓ３Ｌ Ｓｃｈｏｔｔｋｙ Ｓｅｌｆ Ａｌｉｇｎｅｄ Ｓｕｐｅｒ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌｏｇｉｃ 

ＳＳＴ Ｓｕｐｅｒ Ｓｅｌｆ－ａｌｉｇｎｅｄ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

ＳＳＴ Ｓｕｐｅｒ Ｓｏｎｉｃ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ（超音速旅客機） 

ＳＳＴＭ Ｓｍａｌｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｍｏｌｄ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ 

ＳＴＡ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ａｇｅｎｃｙ（科学技術庁） 

ＳＴＡＭＰ Ｓｏｌｄｅｒｉｎｇ， Ｔｅｓｔ Ａｎａｌｙｚｅｒ， 

 Ｍａｒｋｉｎｇ ＆ Ｐａｃｋｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＳＴＢ Ｓｅｔ Ｔｏｐ Ｂｏｘ（チューナーやアダプターのこと） 

ＳＴＤ Ｓｔａｎｄａｒｄ（標準、標準的な） 

ＳＴＥＭ Ｓｃａｎｎｉｎｇ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ 

ＳＴＥＰ Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＆ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 

ＳＴＥＰ－９０ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ａｎｄ 

 Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｔｏｗａｒｄ １９９０ｓ 

ＳＴＩ Ｓｈａｌｌｏｗ Ｔｒｅｎｃｈ Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ（浅いトレンチによる素子間分離） 

ＳＴＬ Ｓｃｈｏｔｔｋｙ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｌｏｇｉｃ 

ＳＴＭ Ｓｃａｎｎｉｎｇ Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ（走査型トンネル顕微鏡） 

ＳＴＮ Ｓｕｐｅｒ Ｔｗｉｓｔｅｄ Ｎｅｍａｔｉｃ（ねじれネマティック方式） 

ＳＴＴＬ Ｓｃｈｏｔｔｋｙ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ－Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｌｏｇｉｃ 

ＳＵＰＥＲ Ｓｏｌｄｅｒ Ｕｔｉｌｉｚｅｄ Ｐｒｏｃｅｓｓ ｗｉｔｈ Ｅｕｔｅｃｔｉｃ Ｒｅａｃｔｉｏｎ 

ＳＵＳ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｕｓｅ Ｓｔａｉｎｌｅｓｓ Ｓｔｅｅｌ（特殊用途ステンレス鋼材） 

ＳＶＧＡ Ｓｕｐｅｒ Ｖｉｄｅｏ Ｇｒａｐｈｉｃｓ Ａｒｒａｙ（８００×６００ドットの表示規格） 

ＳＶＳ Ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒｙ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＳＷ Ｓｗｉｔｃｈ（スイッチ） 

ＳＷＲ Ｓｔａｎｄｉｎｇ Ｗａｖｅ Ｒａｔｉｏ（定在波比） 

ＳＸＧＡ Ｓｕｐｅｒ Ｅｘｔｅｎｄｅｄ Ｇｒａｐｈｉｃｓ Ａｒｒａｙ（１２８０×１０２４ドットの表示規格） 



 ３５

＊ Ｔ 

ＴＡ Ｔｅｒｍｉｎａｌ Ａｄａｐｔｅｒ（ISDN用端末装置） 

ＴＡＢ Ｔａｐｅ Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｂｏｎｄｉｎｇ（テープキャリア方式の一括自動ボンディング法） 

ＴＡＰＬＡＳ ＴＯＳＨＩＢＡ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｐａｔｔｅｒｎ Ｌａｙｏｕｔ 

 ａｎｄ Ａｎａｌｙｓｉｓ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＴＡＴ Ｔｕｒｎ Ａｒｏｕｎｄ Ｔｉｍｅ（開発・試作・評価などの時間） 

ＴＣ Ｔｈｅｒｍｏ Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ（熱収縮） 

ＴＣＭ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ Ｍｏｄｕｌｅ（熱伝導モジュール） 

ＴＣＰ Ｔａｐｅ Ｃａｒｒｉｅｒ Ｐａｃｋａｇｅ（テープ状のフィルムを使用したＩＣパッケージ） 

ＴＣＰ／ＩＰ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 

 Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（業界標準水平分散プロトコル） 

ＴＣＲ Ｔｉｍｅ Ｃｏｕｎｔｅｒ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ 

ＴＣＳ Ｔｒｉｃｈｒｏｌｅ Ｓｉｌｉｃｏｎ（三塩化シリコン） 

ＴＣＴ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｃｙｃｌｅ Ｔｅｓｔ（熱衝撃サイクル試験） 

ＴＤ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｄａｔａ（技術データ） 

ＴＤＤＢ Ｔｉｍｅ Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｂｒｅａｋｄｏｗｎ（酸化膜の経時絶縁破壊） 

ＴＤＨ Ｔｉｍｅ Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｈａｚｅ（経時変化ヘイズ） 

ＴＥＡ ＣＯ２ Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅｌｙ Ｅｘｃｉｔｅｄ Ａｔｏｍｏｓｐｈｅｒｉｃ ＣＯ２ 

ＴＥＤ ＴＯＳＨＩＢＡ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｄａｔａ（東芝技術データ） 

ＴＥＧ Ｔｅｓｔ Ｅｌｅｍｅｎｔ Ｇｒｏｕｐ（プロセス評価用素子） 

ＴＥＧ Ｔｒｉｅｔｈｙｌｇａｌｌｉｕｍ（トリエチルガリウム） 

ＴＥＭ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ（透過型電子顕微鏡） 

ＴＥＯＳ Ｔｅｔｒａｅｔｈｙｌｏｒｔｈｏｓｉｌｉｃａｔｅ（テトラエチルオルソシリケート） 

ＴＥＳ ＴＯＳＨＩＢＡ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｓｔａｎｄａｒｄ（東芝技術標準） 

ＴＦＩＣ Ｔｈｉｃｋ Ｆｉｌｍ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ（厚膜集積回路） 

ＴＦＰ Ｔａｓｋ Ｆｏｒｃｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ 

ＴＦＴ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｆａｔｉｇｕｅ Ｔｅｓｔ（熱疲労試験） 

ＴＦＴ Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（薄膜トランジスタ） 

ＴＧＡ Ｔｈｅｒｍｏｇｒａｖｉｍｅｔｒｉｃ Ａｎａｌｙｚｅｒ 

ＴＨＢ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ， Ｈｕｍｉｄｉｔｙ ＆ Ｂｉａｓ 

ＴＨＣ Ｔｏｔａｌ Ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎ（全炭化水素） 

ＴＩ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（技術情報） 

ＴＩ Ｔｏｔａｌ Ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ 

ＴＩＦＦ Ｔａｇｇｅｄ Ｉｍａｇｅ Ｆｉｌｅ Ｆｏｒｍａｔ（画像処理用ファイル形式） 

ＴＩＲ Ｔｏｔａｌ Ｉｎｄｉｃａｔｉｎｇ Ｒｅａｄｉｎｇ（ウェーハ表面と基準平面との距離の最大・最小の差） 

ＴＬＣＳ ＴＯＳＨＩＢＡ ＬＳＩ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＴＭＡ Ｔｈｅｒｍｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ａｎａｌｙｚｅｒ（熱機械分析器） 

ＴＭＡ Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌａｌｕｍｉｎｕｍ（トリメチルアルミニウム） 

ＴＭＡＨ Ｔｅｔｒａ Ｍｅｔｈｙｌ Ａｍｍｏｎｉｕｍ Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ 

ＴＭＤ Ｔｔｒａｎｓｆｅｒ Ｍｏｌｄ Ｄｉｅ（熱硬化樹脂モールド型） 

ＴＭＧ Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｇａｌｌｉｕｍ（トリメチルガリウム） 

ＴＭＰ Ｔｕｒｂｏｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｐｕｍｐ（ターボ分子ポンプ） 



 ３６

ＴＯ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｏｕｔｌｉｎｅ（トランジスタの外囲器） 

ＴＯＣ Ｔｏｔａｌ Ｏｒｇａｎｉｃ Ｃａｒｂｏｎ（全有機炭素） 

ＴＯＥＦＬ（ﾄー ﾌﾙ） Ｔｅｓｔｉｎｇ ｏｆ Ｅｎｇｌｉｓｈ ａｓ  

 ａ Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｌａｎｇｕａｇｅ（英語圏の大学に入学するための外国人への学力テスト） 

ＴＯＥＩＣ（ﾄー ｲｯｸ） Ｔｅｓｔ ｏｆ Ｅｎｇｌｉｓｈ ｆｏｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  

 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（英語での国際的なコミュニケーション能力を測定するテスト） 

ＴＯＰＩＣＳ Ｔｏｔａｌ Ｏｎ－ｌｉｎｅ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 

 ａｎｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＴＯＰＩＸ Ｔｏｋｙｏ Ｓｔｏｃｋ Ｐｒｉｃｅ Ｉｎｄｅｘ（東証株価指数） 

ＴＯＰＲＵＮ Ｔｏｔａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ 

ＴＯＰＳ Ｔｅｓｔ Ｐｒｏｇｒａｍ Ｏｐｔｉｍｉｚｉｎｇ Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｓｙｓｔｅｍ 

ＴＯＶ Ｔｕｒｎ Ｏｕｔ Ｖａｌｕｅ 

ＴＯＸ Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ ｏｆ Ｏｘｉｄｅ（酸化膜厚さ） 

ＴＰ Ｔｅｓｔ Ｐｉｅｃｅ（テストピース） 

ＴＰ Ｔｏｔａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ（全体生産性） 

ＴＰＨ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｐｒｉｎｔｉｎｇ Ｈｅａｄ（感熱印刷素子） 

ＴＰＬ Ｔｒａｎｓｐａｒｌｕｃｅｎｔ 

ＴＰＭ Ｔｏｔａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ（総合生産保全） 

ＴＰＯ Ｔｉｍｅ， Ｐｌａｃｅ， Ｏｃｃａｓｉｏｎ（時、場所、場合） 

ＴＰＳＳ Ｔｅｃｈｏｒａｎｄｏｍ Ｐｉｐｅ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｓ（高級炭化珪素チューブ） 

ＴＱＣ Ｔｏｔａｌ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ（総合的品質管理） 

ＴＱＭ Ｔｏｔａｌ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（業務・経営全体の質向上管理） 

ＴＲ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（トランジスタ） 

ＴＲＩＡＣ Ｔｒｉｏｄｅ ＡＣ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｓｗｉｔｃｈ（双方向サイリスタ） 

ＴＲＯＮ Ｔｈｅ Ｒｅａｌｔｉｍｅ Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ Ｎｕｃｌｅｕｓ（ＰＣ用日本版ＯＳ） 

ＴＲＸＲＦ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ Ｘ－Ｒａｙ Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ 

  ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（全反射蛍光Ｘ線分光） 

ＴＳ Ｔｅｓｔ Ｓａｍｐｌｅ（試験用見本） 

ＴＳ Ｔｈｅｒｍｏ Ｓｏｎｉｃ（熱超音波法） 

ＴＳＧ ＴＯＳＨＩＢＡ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｇｅｒｍａｎｙ（東芝西ドイツ社） 

ＴＳＩＡ Ｔａｉｗａｎ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ 

  Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（台湾半導体産業協会） 

ＴＳＯＰ Ｔｈｉｎ Ｓｍａｌｌ Ｏｕｔｌｉｎｅ Ｐａｃｋａｇｅ（表面実装用薄型パッケージ） 

ＴＳＳ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｓｔｅｐ Ｓｔｒｅｓｓ 

ＴＳＳ Ｔｉｍｅ Ｓｈａｒｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（時分割多重実行システム） 

ＴＳＴ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｓｈｏｃｋ Ｔｅｓｔ（熱衝撃試験） 

ＴＳＴＳＳ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｓｈｏｃｋ Ｔｅｓｔ ＆ Ｓｔｅｐ Ｓｔｒｅｓｓ 

ＴＴ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｔｒａｎｓｆｅｒ（技術移転） 

ＴＴＬ Ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ Ｌｅｎｓ（レンズ透過光による露出条件測定方式） 

ＴＴＬ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ－Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｌｏｇｉｃ（トランジスタ・トランジスタ論理回路） 

ＴＴＶ Ｔｏｔａｌ Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ Ｖａｒｉａｔｉｏｎ（ウェーハ全面の厚さバラツキ） 

ＴＶ Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ（テレビジョン） 



 ３７

ＴＶ Ｔｅｓｔ Ｖｏｌｔａｇｅ（試験電圧） 

ＴＶ Ｔｏｇｇｌｅ Ｖａｌｖｅ 

ＴＷＡＩＮ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｗｉｔｈｏｕｔ Ａｎｙ Ｉｎｔｅｒｅｓｔｅｄ  

 Ｎａｍｅ（パソコンに画像を取り込むための標準規格） 

ＴＸＲＦ Ｔｏｔａｌ ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ Ｘ－Ｒａｙ Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ 

  ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（全反射蛍光Ｘ線分光） 

ＴＺＤＢ Ｔｉｍｅ Ｚｅｒｏ Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｂｒｅａｋｄｏｗｎ 



 ３８

＊ Ｕ 

ＵＢＭ Ｕｎｄｅｒ Ｂｕｍｐ Ｍｅｔａｌ（バンプ下バリアメタル） 

ＵＣＬ Ｕｐｐｅｒ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｌｉｍｉｔ（上方管理限界） 

ＵＣＳ Ｕｌｔｒａ Ｃｌｅａｎ Ｓｏｃｉｅｔｙ（超清浄度協会） 

ＵＣＴ Ｕｌｔｒａ Ｃｌｅａｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（超清浄化技術） 

ＵＤＯ Ｕｎｄｏｐｅｄ Ｏｘｉｄｅ（非ドープ酸化膜） 

ＵＦ Ｕｌｔｒａ Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ（限外ろ過） 

ＵＦＯ Ｕｎｉｄｅｎｔｉｆｉｅｄ Ｆｌｙｉｎｇ Ｏｂｊｅｃｔ（未確認飛行物体） 

ＵＨＦ Ｕｌｔｒａ－Ｈｉｇｈ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ（極超短波） 

ＵＪＴ Ｕｎｉ－Ｊｕｎｃｔｉｏｎ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ 

ＵＬ Ｕｎｄｅｒｗｒｉｔｅｒｓ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ Ｉｎｃ．（米国材料・装置の検査機関） 

ＵＬＰＡ Ｕｌｔｒａ Ｌｏｗ Ｐｅｎｅｔｒａｔｉｏｎ Ａｉｒ 

ＵＮＥＳＣＯ Ｕｎｉｔｅｄ Ｎａｔｉｏｎｓ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ， Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ ＆ 

 Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（国連教育科学文化機関） 

ＵＰＳ Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ 

ＵＰＳ Ｕｎｉｎｔｅｒｒｕｐｔｉｂｌｅ Ｐｏｗｅｒ Ｓｕｐｐｌｙ（無停電電源装置） 

ＵＲＬ Ｕｎｉｆｏｒｍ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｌｏｃａｔｏｒ（インターネット上のファイルの住所） 

ＵＳ Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ（超音波） 

ＵＳＢ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ（ＰＣと周辺機器を接続するためのインターフェース） 

ＵＳＭ Ｕｌｔｒａ Ｓｕｐｅｒ Ｍｉｎｉ Ｐａｃｋａｇｅ 

ＵＳＰ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ Ｐａｔｅｎｔ（米国特許） 

ＵＶ Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ Ｒａｙｓ（紫外線） 



 ３９

＊ Ｖ 

ＶＡ Ｖａｌｕｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ（価値分析） 

ＶＡ Ｖａｌｕｅ Ａｓｓｕｒａｎｃｅ 

ＶＡＤ Ｖａｐｏｒ ｐｈａｓｅ Ａｘｉａｌ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ 

ＶＡＮ Ｖａｌｕｅ Ａｄｄｅｄ Ｎｅｔｗｏｒｋ（付加価値通信網） 

ＶＡＴ Ｖａｌｕｅ Ａｄｄｅｄ Ｔａｘ（付加価値税） 

Ｖ－ＡＴＥ Ｖ－Ｓｈａｐｅｄ Ａｉｒ Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

ＶＣ Ｖａｌｕｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ（価値管理） 

ＶＣＤ Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ Ｄｉｏｄｅ（可変容量ダイオード） 

ＶＣＭ Ｖｏｉｃｅ Ｃｏｉｌ Ｍｏｔｏｒ（ボイスコイルモータ） 

ＶＣＭ Ｖｏｌｔａｇｅ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｍｕｌｔｉｖｉｂｒａｔｏｒ 

ＶＣＯ Ｖｏｌｔａｇｅ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ（電圧制御発振回路） 

ＶＣＲ Ｖｉｄｅｏ Ｃａｓｓｅｔｔｅ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ（ＶＴＲの海外での呼称） 

ＶＤＰ Ｖｉｄｅｏ Ｄｉｓｋ Ｐｌａｙｅｒ 

ＶＤＴ Ｖｉｄｅｏ Ｄｉｓｐｌａｙ Ｔｅｒｍｉｎａｌ（ディスプレイ端末） 

ＶＥ Ｖａｌｕｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ（価値工学） 

ＶＦＤ Ｖａｃｕｕｍ Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ Ｄｉｓｐｌａｙ（真空蛍光表示管） 

ＶＧ Ｖａｐｏｒ Ｇｒｏｗｔｈ（気相成長） 

ＶＧＡ Ｖｉｄｅｏ Ｇｒａｐｈｉｃｓ Ａｒｒａｙ（６４０×４８０ドットの表示規格） 

ＶＨＦ Ｖｅｒｙ Ｈｉｇｈ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ（超短波） 

ＶＨＳ Ｖｉｄｅｏ Ｈｏｍｅ Ｓｙｓｔｅｍ（家庭用ビデオシステム） 

ＶＨＳＩＣ Ｖｅｒｙ Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ ＩＣ（超高速集積回路） 

ＶＩ Ｖａｌｕｅ Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ（価値改善） 

ＶＩＣＳ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ 

  Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ（道路交通情報通信システム） 

ＶＩＬ Ｖｅｒｔｉｃａｌ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌｏｇｉｃ（縦方向注入ロジック） 

ＶＩＳＩＯＮ Ｖａｌｕｅ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ， Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ ｏｆｆｉｃｅ， 

 Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ ｏｆｆｉｃｅ， Ｏｆｆｉｃｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ 

ＶＩＳＴ Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ Ｉｓｏｌａｔｅｄ Ｓｅｌｆ－ａｌｉｇｎｅｄ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ 

ＶＬＳＩ Ｖｅｒｙ Ｌａｒｇｅ Ｓｃａｌｅ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ（超大規模集積） 

ＶＯＣ Ｖｏｌａｔｉｌｅ Ｏｒｇａｎｉｃ Ｃｏｍｐｏｕｎｄ（揮発性有機化合物） 

ＶＰＤ Ｖａｐｏｒ Ｐｈａｓｅ Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ Ｍｅｔｈｏｄ（気相中分解法） 

ＶＰＥ Ｖａｐｏｒ Ｐｈａｓｅ Ｅｐｉｔａｘｙ（気相エピタキシャル成長） 

ＶＰＳ Ｖａｐｏｒ Ｐｈａｓｅ Ｓｏｌｄｅｒｉｎｇ（気相はんだ法） 

ＶＲ Ｖａｌｕｅ Ｒｅｓｅａｒｃｈ（価値研究） 

ＶＲ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｒｅａｌｉｔｙ（仮想現実感） 

ＶＲＡＭ Ｖｉｄｅｏ ＲＡＭ（画面出力用メモリ） 

ＶＳＯＰ Ｖｅｒｙ Ｓｍａｌｌ Ｏｕｔｌｉｎｅ Ｐａｃｋａｇｅ 

ＶＴＲ Ｖｉｄｅｏ Ｔａｐｅ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ（ビデオデッキ） 

ＶＶＶＦ Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｖｏｌｔａｇｅ Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ（可変電圧可変周波数装置） 



 ４０

＊ Ｗ 

ＷＡ Ｗｏｒｋ Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ（ワークアサインメント、業務割付） 

ＷＡＴ Ｗａｆｅｒ Ａｐｐｒｏｖａｌ Ｔｅｓｔ（ウェーハ認定試験） 

ＷＡＴ Ｗａｆｅｒ Ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ Ｔｅｓｔ 

ＷＢ Ｗｉｒｅ Ｂｏｎｄｅｒ（ワイヤボンダ） 

ＷＢ Ｗｉｒｅ Ｂｏｎｄｉｎｇ（ワイヤボンディング） 

ＷＤＩＰ Ｄｕａｌ Ｉｎｌｉｎｅ Ｐａｃｋａｇｅ ｗｉｔｈ Ｗｉｎｄｏｗ（窓付きＤＩＰ） 

ＷＤＭ Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ（波長分割多重方式） 

ＷＤＭＡ Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ Ａｃｃｅｓｓ（波長分割多重接続） 

ＷＦ Ｗｏｒｋ Ｆａｃｔｏｒ（ワークファクタ） 

ＷＧ Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ（作業部会） 

ＷＨＯ Ｗｏｒｌｄ Ｈｅａｌｔｈ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（世界保健機関） 

ＷＩＳ Ｗａｆｅｒ Ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ（ウェーハ表面検査システム） 

ＷＪ Ｗｏｒｋ Ｊｏｂ 

ＷＬＢＩ Ｗａｆｅｒ Ｌｅｖｅｌ Ｂｕｒｎ－Ｉｎ（ウェーハでのバーンインテスト） 

ＷＬＰ Ｗａｆｅｒ Ｌｅｖｅｌ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ（ウェーハでの外囲器形成） 

ＷＯＭ Ｗｒｉｔｅ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ（書込み専用メモリ） 

ＷＰ Ｗｏｒｄ Ｐｒｏｃｅｓｓｅｒ（ワードプロセッサー、ワープロ） 

ＷＰＨ Ｗａｆｅｒｓ ｐｅｒ Ｈｏｕｒ（１時間当たりのウェーハ処理数） 

ＷＳ Ｗｏｒｋ Ｓａｍｐｌｉｎｇ（ワークサンプリング） 

ＷＳ Ｗｏｒｋ Ｓｔａｔｉｏｎ（ワークステーション） 

ＷＳＡ Ｗａｆｅｒ Ｓｕｒｆａｃｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ（ウェーハ表面不純物分析） 

ＷＳＣ Ｗｏｒｌｄ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｃｏｕｎｃｉｌ（世界半導体会議） 

ＷＳＩ Ｗａｆｅｒ Ｓｃａｌｅ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ（ウェーハ規模集積化） 

ＷＳＴＳ Ｗｏｒｌｄ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｔｒａｄｅ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ（世界半導体市場統計） 

ＷＴＯ Ｗｏｒｌｄ Ｔｒａｄｅ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ （世界貿易機構） 

ＷＷＷ Ｗｏｒｌｄ Ｗｉｄｅ Ｗｅｂ（インターネット広域情報システム） 

ＷＹＳＩＷＹＧ Ｗｈａｔ Ｙｏｕ Ｓｅｅ ｉｓ Ｗｈａｔ Ｙｏｕ Ｇｅｔ（画面で見た通りの印刷ができること） 



 ４１

＊ Ｘ 

ＸＧＡ Ｅｘｔｅｎｄｅｄ Ｇｒａｐｈｉｃｓ Ａｒｒａｙ（１０２４×７６８ドットの表示規格） 

ＸＭＡ Ｘ－Ｒａｙ Ｍｉｃｒｏ Ａｎａｌｙｚｅｒ（Ｘ線マイクロ分析装置） 

ＸＰＳ Ｘ－Ｒａｙ Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（Ｘ線励起光電子分光） 

ＸＲＴ Ｘ－Ｒａｙ Ｔｏｐｏｇｒａｐｈ（Ｘ線トポグラフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ Ｙ 

ＹＡＧ Ｙｔｔｒｉｕｍ Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ Ｇａｒｎｅｔ（レーザ光発振用材料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ Ｚ 

ＺＤ Ｚｅｒｏ Ｄｅｆｅｃｔｉｖｅ Ｍｏｖｅｍｅｎｔ（無欠点運動） 

ＺＥＶ Ｚｅｒｏ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｖｅｈｉｃｌｅ（無公害車） 

ＺＩＰ Ｚｉｇｚａｇ Ｉｎｌｉｎｅ Ｐａｃｋａｇｅ 

ＺＩＰ Ｚｏｎｅ Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ Ｐｒｏｇｒａｍ（米国郵便番号） 
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